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Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7 
Nr referencyjny: IZP.270.102.2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na „Dostawę skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) i dyfraktometru rentgenowskiego w formie leasingu”
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 214 000 euro

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
Specyfikację zatwierdzono: 28.10. 2020r.
UWAGI OGÓLNE

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.
2. Zamówienie nie dotyczy programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

3. Ogłoszenie o zamówieniu  zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, oraz umieszczone na stronie internetowej www.ncbj.gov.pl.

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

5. Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

I. ZAMAWIAJĄCY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH 

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock (Świerk)

www.ncbj.gov.pl, e-mail: zp@ncbj.gov.pl, przetargi@ncbj.edu.pl
tel.: 22 - 273 16 30, fax 022- 273 16 53
REGON: 001024043

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214 000 euro. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) i dyfraktometru rentgenowskiego w formie leasingu.
2. Zamówienie składa się z dwóch etapów.
Etap I obejmuje dostawę skaningowego mikroskopu elektronowego,
Etap II obejmuje: dostawę dyfraktometru

3. Okres finansowania przedmiotu Umowy wyniesie 24 miesiące. 
4. Szczegółową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 do SIWZ (Specyfikacja techniczna). 
5. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

38511100-1 Skanujące mikroskopy elektronowe
38530000-9 Aparatura dyfrakcyjna 
66114000-2 Usługi leasingu finansowego

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, w przypadkach, w których wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w specyfikacji. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.
7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał lub wyrób jest zgodny z wymogami określonymi w specyfikacji podejmie Zamawiający na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę informacji o materiałach lub wyrobach (np. katalogi, certyfikaty).
8. W przypadku, gdy Zamawiający powołuje się na normy, atesty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty do nich równoważne. 
IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 USTAWY
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

1. Etap I – dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
2. Etap II – dostawa dyfraktometru do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Okres finansowania przedmiotu Umowy wyniesie 24 miesiące.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) sytuacja finansowa lub ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3) zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:

-- dwóch usług leasingu finansowego o wartości co najmniej 300 tys. PLN  i/lub co najmniej dwóch dostaw sprzętu laboratoryjnego o wartości co najmniej 2 mln PLN każda
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Postanowień zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Dokument składany wraz ofertą - oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) (stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ) przygotowany przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowań, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. JEDZ dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. Oświadczenia zawarte w JEDZ będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
1) Oświadczenie winno potwierdzać stan faktyczny na dzień składania ofert.

2) Wymóg złożenia oświadczenia JEDZ dotyczy:
Wykonawców - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - składa każdy z Wykonawców (konsorcjantów).
Warunki przesłania oświadczenia JEDZ określono w rozdziale XIV.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu na adres e-mail: przetargi@ncbj.edu.pl, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji, lub elektroniczną kopię oświadczenia poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ).
3. Dokumenty lub oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego na adres e-mail: przetargi@ncbj.edu.pl. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów:  

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 

a) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenia o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ),

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ).

2) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:


- w ppkt. 1 lit. a) przedkłada informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.

b) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 2 lit a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

4. Dokumenty lub oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczenia, które każdego z nich dotyczą.
6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt 4, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 9.
12. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 9, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
13. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu lub oświadczenia, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do osobistego udziału pracowników Zamawiającego w doświadczalnej weryfikacji wybranych parametrów urządzeń w laboratorium wskazanym przez producenta na terenie Europy przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Niespełnienie wymagań technicznych skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
VIII. ZALICZKI 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
IX. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Wykonawca zamieszcza informację o podwykonawcach w formularzu ofertowym (pkt 9), stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

3. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia wobec podwykonawców, o których mowa w pkt 2. 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 242 908,64 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiem 64/100 złotych ), przed upływem terminu składania ofert.

2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.
3. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o następującym numerze: 
PKO BP XII O/W-wa 58 1020 1127 0000 1902 0007 3015 
w tytule przelewu wpisując: „Wadium, nr sprawy IZP.270.102.2020”.
Dla wykonawcy zagranicznego: 
Nr rachunku 58102011270000190200073015, 
IBAN PL58102011270000190200073015, 
SWFT BPKOPLPW,

PKO Bank Polski SA, II Regionalne Centrum Korporacyjne w Warszawie

ul. Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa.

4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, Wykonawca wnosi wadium w oryginale. Beneficjentem wadium wnoszonego w przedmiotowej formie jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych.
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia - z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji oraz gwaranta wraz z adresami ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji; bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust 4a i ust. 5 ustawy.
7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie 
lub
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/. Korzystanie z miniPortalu jest bezpłatne.
2. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Umów

e-mail: przetargi@ncbj.edu.pl lub tel. - numer +48 22 2731630.
4. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego www.ncbj.gov.pl/przetargi.

5. Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku 08:00-16:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ wraz z Załącznikiem A. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonych formularzy złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularzy.

2. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a) Powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który winien być złożony przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy. 
b) Jeżeli Wykonawcę będzie reprezentował pełnomocnik do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w postaci dokumentu elektronicznego. Pełnomocnictwo powinno wskazywać zakres uprawnień i być podpisane podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
c) W przypadku oferty składanej wspólnie do oferty musi być załączone pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania uczestników konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
d) Ofertę należy złożyć w oryginale.
3. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
4. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, dokumentach lub oświadczeniach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec poprzez złożenie ich w osobnym pliku wraz z jednoczesnym oznaczeniem pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część, skompresowane do jednego pliku archiwum .zip. Pliki powinny być odrębnie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
5. Każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XIV. SKŁADANIE OFERTY, PRZEKAZYWANIE INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU ORAZ KOPII ODWOŁAŃ
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania ofert oraz do formularza do komunikacji. 

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu  opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

5. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz udostępnione są na stronie internetowej Zamawiającego https://ncbj.gov.pl/przetargi w zakładce odnoszącej się do przedmiotowego postępowania.

6. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, w tym JEDZ, skompresowaną do jednego pliku archiwum.zip za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP, udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/Formularze.aspx).

7. W przypadku składania, uzupełnienia lub poprawienia JEDZ na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, JEDZ w formie elektronicznej należy przesłać e-mailem na adres Zamawiającego: przetargi@ncbj.edu.pl.
8. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz dokumentów innych niż wymienionych w rozdziale XIII SIWZ, odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej, na adres Zamawiającego przetargi@ncbj.edu.pl.
9. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, przy użyciu którego prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

10. Za datę przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 8 przyjmuje się datę ich wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego przetargi@ncbj.edu.pl
11. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu pocztą elektroniczną - wyłącznie na adres: przetargi@ncbj.edu.pl,
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa dnia 30.11.2020 r. do godz. 9.00.
2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę oraz załączniki do oferty, za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP, udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty oraz adekwatnie załączników do oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

3. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7, bud 28 pokój 6
w dniu 30.11.2020 r. o godzinie 13.00.
5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówień, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
9. Informacje z otwarcia ofert Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej www.ncbj.gov.pl/przetargi.
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca oblicza cenę zgodnie z opisem na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Załącznik A do formularza oferty.

2. Cena musi obejmować wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia wraz z uwzględnieniem podatku od towarów i usług.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
3. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

4. Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Cena przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega negocjacji.

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Kryterium oceny ofert:

· cena „C”
 - 20%,
· opłata początkowa „O”
 - 10%,
· punkty dodatkowe „P”
 - 70%.
2. Sposób oceny ofert 

a) Kryterium cena „C” 


 
maksymalnie 30 punktów
	Liczba punktów oferty badanej             =
	Cena oferty najniższej   x   30

Cena oferty badanej


b) Kryterium opłata początkowa „O” 

maksymalnie 10 punktów
	Wysokość opłaty początkowej
	Liczba punktów

	500 000,00 zł 
	0

	400 000,00 zł 
	2

	300 000,00 zł
	4

	200 000,00 zł
	6

	100 000,00 zł
	8

	 0,00 zł
	10


c) Kryterium punkty dodatkowe „P”

maksymalnie 70 punktów
Punkty dodatkowe będą przyznawane na podstawie tabel wymagań dodatkowych – załączniki do SIWZ nr 1 pkt 2 i 4. 

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów „C” + „O”+„P”.

XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez konsorcjum, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.
XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. WZÓR UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik Nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiający powiadomi odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania umowy, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach określonych w art. 94 ust. 3 ustawy, Zamawiający wybierze ofertę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę.
XXI. ZMIANA UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy  w następujących przypadkach i na następujących warunkach:
a) zmiana wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

b) zmiana w obowiązujących przepisach prawa, powodująca konieczność dokonania zmian w Umowie,
c) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:

- przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres przestojów i opóźnień;

-   innych przerw w realizacji dostawy, powstałych z przyczyn niezależnych od Finansującego; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres zaistniałych przerw;

d) w przypadku zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego postępowania Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, pandemię, epidemię,  zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

e) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej Umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej Umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu i nie wpłynie to na cel przetargu oraz wymogi kontraktowania.
g) zmiana wysokości rat leasingowych,
h) zmiana wysokości oprocentowania,
i) zmiana okresu trwania Umowy,
j) postanowień umowy o charakterze nieistotnym,
w sytuacji wystąpienia istotnej zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego bądź jego struktury.
Powyższe zmiany nie mogą powodować wzrostu łącznego wynagrodzenia brutto, ustalonego w oparciu o pierwotne zapisy Umowy, za wyjątkiem zmian wynikających ze wzrostu stopy WIBOR w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty z uwzględnieniem aktualizacji harmonogramu płatności.

2. Powyższe postanowienia ust. 1 ppkt. c stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowiąc jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
3. Zmiana oprocentowania leasingu spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Dostawcą aneksu do Umowy.
XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI ustawy, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,  iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
10. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
11. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
12. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460) o prokuratorze.
13. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
XXIII. OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych 05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7 tel. 22 273 001; e-mail:ncbj@ncbj.gov.pl;

· kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych 
ul. Sołtana 7, 05-400 Otwock lub e-mail: iod@ncbj.gov.pl;

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;  

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 

·  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

· posiada Pani/Pan:

−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
;

−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
;  

−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

· nie przysługuje Pani/Panu:

−
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Załączniki stanowiące integralna część SIWZ:
1. Specyfikacja techniczna przedmiotu dostawy w formie leasingu,
2. Formularz oferty z Załącznikiem A ,
3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
4. Wzór umowy,
5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,
6. Oświadczenia wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia  na podstawie art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 ustawy,
7. Wniosek o udostępnienie informacji.
Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna przedmiotu dostawy w formie leasingu
Przedmiotem dostawy w formie leasingu są fabrycznie nowe i nieużywane: wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) najnowszej generacji w układzie ze zogniskowaną wiązką jonów (FIB) wraz z systemem mikroanalizy EDS oraz systemem do dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) oraz dyfraktometr rentgenowski umożliwiający pomiary w układzie Bragg-Brentano i GXRD (GID) wyposażony w przystawkę umożliwiającą pomiary in-situ w wysokich temperaturach, min. 1200C. Oba urządzenia muszą być wyposażone we wszystkie elementy niezbędne do pracy (jak np. zamknięty układ chłodzenia, komputery sterujące, oprogramowanie i bazy danych, osłony, kable i przewody itp.). Mikroskop skaningowy ma umożliwiać cyfrową rejestrację obrazów i służyć do obrazowania w kontraście topograficznym, kompozycyjnym oraz w trybie prześwietleniowym (STEM), jak również  umożliwiać analizę składu próbek materiałów nieorganicznych: metali, półprzewodników, ceramiki, polimerów, w tym próbek nieprzewodzących.

Urządzenia mają być dostarczone i zainstalowane z wyposażeniem w kompletacji i o parametrach zgodnych z określonymi w tabeli poniżej. 

Dostawa i instalacja mają być zrealizowane w formie leasingu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji deklarowanych parametrów technicznych u Oferenta urządzeń przed wyborem najkorzystniejszej oferty. W przypadku niespełnienia wymagań technicznych przez Oferenta oferta zostaje odrzucona.. Weryfikacja deklarowanych przez Oferenta parametrów technicznych urządzeń musi być przeprowadzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia żądania przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli Zamawiającego.
1. Skaningowy mikroskop elektronowy

	Lp.
	
Elementy wyposażenia i parametry techniczne (zarówno samego Urządzenia, jak i elementów wyposażenia dodatkowego)
	Wymagania minimalne, jakie powinno spełniać zamawiane Urządzenie

	1
	Źródło wiązki elektronów
	Działo elektronowe z zimną emisją polową lub działo elektronowe z termiczną emisją (emiter Schottky’ego)

	2
	Zdolność rozdzielcza obrazowania w modzie SE przy 15 kV
	Nie gorsza niż 0,7 nm (gwarantowana w miejscu instalacji)

	3
	Zdolność rozdzielcza obrazowania w modzie SE przy 1 kV
	Nie gorsza niż 1,5 nm (gwarantowana w miejscu instalacji)

	4
	Zdolność rozdzielcza obrazowania w modzie SE przy 500 V
	Nie gorsza niż 1,5 nm (gwarantowana w miejscu instalacji)

	5
	Zdolność rozdzielcza obrazowania w trybie BF STEM przy 30 kV
	Nie gorsza niż 0,7 nm 

(gwarantowana w miejscu instalacji)

	6
	Minimalny zakres energii elektronów osiągających próbkę
	100 eV – 30 keV

	7
	Minimalny zakres prądu wiązki


	Co najmniej od 5 pA do co najmniej 100 nA

	8
	Niezależna regulacja wartości napięcia przyspieszającego i prądu wiązki elektronowej
	Wymagana 

	9
	Urządzenie musi być wyposażone w układ do pomiaru prądu wiązki elektronowej i jonowej 
	Wymagane 

	10
	Wewnątrzkomorowy detektor elektronów wtórnych SE
	Wymagany

	11
	Detektor jonów wtórnych i elektronów wtórnych zoptymalizowany do pracy z kolumną jonową
	Wymagany 

	12
	Detektor elektronów wstecznie rozproszonych BSE
	Detektor elektronów wstecznie rozproszonych, z podziałem na minimum 3 sektory. Detektor musi być zamontowany na ruchomym, wsuwanym ramieniu pozwalającym na umieszczenie detektora pod nabiegunnikiem obiektywu. Wymagane sterowanie detektorem z poziomu głównego oprogramowania sterującego pracą mikroskopu;

Detektor musi być zoptymalizowany do pracy z jednoczesnym wykorzystaniem mikroanalizy EDS.

	13
	Detektory wewnątrzsoczewkowe
	Co najmniej 2 detektory wewnątrzsoczewkowe (wewnątrzkolumnowe „in-lens”) zapewniające precyzyjną detekcję elektronów wstecznie rozproszonych BSE, a także detekcję sygnału elektronów wtórnych SE. Detektory  rozmieszczone na różnych wysokościach kolumny elektronowej, aby zapewnić selekcję sygnałów SE i BSE w kolumnie mikroskopu

	14
	Detektor elektronów przechodzących (STEM)
	Detektor elektronów przechodzących przez próbkę (STEM) z podziałem na sektory umożliwiające obserwacje w polu jasnym (BF) i polu ciemnym (DF)



	15
	Urządzenie musi posiadać możliwość jednoczesnego zbierania sygnałów z co najmniej 4 detektorów, w tym możliwość uzyskania sygnału z 2 detektorów wewnątrzsoczewkowych jednocześnie
	Wymagane

	16
	Urządzenie musi mieć możliwość jednoczesnej obserwacji przynajmniej 4 żywych obrazów (przy pojedynczym skanie wiązką elektronów) z różnych detektorów na ekranie jednego monitora (np. dla celów porównawczych)
	Wymagane

	17
	Mikroskop musi posiadać funkcję automatycznej korekcji dryfu, aktywowaną np. w przypadku integracji wielu kolejnych ramek skanowania w ramach jednego obrazu
	Wymagane

	18
	Generator skanu
	Mikroskop musi być wyposażony w generator skanu umożliwiający:

a. integrację wielu ramek z automatyczną korekcją dryfu,

b. wielokrotne skanowanie pojedynczej linii ramki (integracja liniowa) celem poprawy stosunku sygnał/szum,



	19
	Podgląd wnętrza komory mikroskopu podczas pracy
	Wymagana co najmniej jedna kamera IR CCD z podświetlaniem (ang. IR-illumination) do podglądu wnętrza komory próbki;

Obraz z kamery wyświetlany na monitorze LCD.

	20
	Kamera do wstępnego obrazowania powierzchni preparatów umieszczonych na stoliku
	Wymagana kamera do wstępnego obrazowania powierzchni preparatów umieszczonych na stoliku. Wymagana kamera zintegrowana z obszarem komory mikroskopu, charakteryzująca się rozdzielczością co najmniej 5 megapikseli. Uzyskane obrazy muszą być w sposób automatyczny przypisywane do koordynat przesuwu stolika. Wymagana możliwość wykonania zdjęcia obejmującego pole widzenia preparatu.

	21
	Zmotoryzowany stolik eucentryczny
	Precyzyjny stolik próbki (działający w oparciu o elementy piezoelektryczne) o powtarzalności minimum 1,5 m o zmotoryzowanych przesuwach w 5-ciu osiach.

Zakresy przesuwów:

- w osi X nie mniejszy niż 150 mm,

- w osi Y nie mniejszy niż 150 mm,

- zakres przesuwu w osi Z nie mniejszy niż 10 mm,

- eucentryczny obrót wokół osi w zakresie 360 stopni dla wszystkich położeń X,Y,

- pochylanie w zakresie nie mniejszym niż od -10( do +59(
Stolik próbki powinien umożliwiać umieszczanie próbek lub akcesoriów o wadze co najmniej 500g 

	22
	Komora preparatu
	Wymagana szerokość komory nie mniejsza niż 300 mm

Wymagane co najmniej 15 portów w komorze

	23
	Śluza do szybkiej wymiany próbki 


	Wymagana;



	24
	Wymiary próbki przechodzącej przez śluzę


	Średnica: co najmniej 30 mm

Wysokość: co najmniej 10 mm

	25
	Uchwyty umożliwiające zamontowanie próbek
	Urządzenie musi być wyposażone w następujące uchwyty:

· uchwyt do zamocowania jednocześnie wielu (co najmniej 5) standardowych stolików okrągłych o średnicy 12,7 mm;

· stoliki okrągłe o średnicy 12,7 mm z jedną nóżką;

· uchwyt próbek dedykowany dla detektora STEM (BF i DF) pozwalający na umieszczenie jednocześnie minimum 6 siateczek TEM;

· uchwyt dedykowany do preparatyki FIB lift-out pozwalający na umieszczenie jednocześnie minimum 4 siateczek TEM; 

· uchwyt dedykowany do pomiarów EBSD (obserwacja przy 70( pochylenia);

· uchwyt dedykowany do obserwacji przełomów próbek (obserwacja przy 90( pochylenia);

	26
	Oprogramowanie sterujące pracą mikroskopu
	Oprogramowanie sterujące pracą mikroskopu musi umożliwiać:

-automatyczną korekcję astygmatyzmu,

-automatyczne ustawienie ostrości obrazu,

-automatyczne ustawienie jasności i kontrastu obrazu,

-ustawienie parametrów urządzenia takich jak: powiększenie, energia elektronów pierwotnych osiągających próbkę, wybór trybu obrazowania,

-akwizycję, zapisywanie (wraz z zestawem wszystkich parametrów pracy mikroskopu) i obróbkę obrazu o rozdzielczości minimum 25 megapikseli w co najmniej następujących przyjętych standardach: TIFF, BMP i JPEG w skali szarości nie mniej niż 16 bitów,

- rejestrację sekwencji video w formacie .avi,

- interaktywne pomiary odległości, pól powierzchni i kątów bezpośrednio na ekranie monitora z automatycznym zapisem rezultatów pomiaru;

Oprogramowanie sterujące mikroskopu i wszystkie aplikacje specjalistyczne, występujące w oferowanym instrumencie powinny być uruchamiane w systemie operacyjnym MS Windows 10 lub równoważny i kompatybilne z innymi standardowymi programami środowiska Microsoft Windows.

Oprogramowanie mikroskopu musi pozwolić na zapisanie jednocześnie zarejestrowanych obrazów przy użyciu przyrostowej nazwy pliku, przy czym wszystkie zapisane w danym momencie obrazy będą mieć taką samą przyrostową liczbą i inny zdefiniowany przez użytkownika prefiks.

Wykonawca przeprowadzać będzie bezpłatną aktualizację oprogramowania sterującego mikroskopem w ciągu 5 lat od daty instalacji w miejscu instalacji mikroskopu.

	27
	Urządzenie do czyszczenia plazmowego
	Zintegrowane z komorą SEM urządzenie do czyszczenia plazmowego (plasma cleaner) pozwalające na oczyszczenie powierzchni preparatu niskoenergetyczną plazmą, bez konieczności wyjmowania próbki z mikroskopu. 

	28
	Bezolejowy system próżniowy
	Wyposażony w bezolejową pompę próżni wstępnej, pompę turbomolekularną oraz minimum dwie pompy jonowe lub równoważny;

Wyposażony w układ do automatycznego przepłukiwania czystym azotem komory mikroskopu sterowany przez komputer.

	29
	Układ chłodzenia
	Urządzenie musi być wyposażone w zamknięty układ chłodzenia wodnego (ang. chiller) zapewniające stabilną pracę całego systemu mikroskopu:

a) zamknięty układ chłodzenia,

b) zdalnie kontrolowany przez mikroskop,

c) woda chłodzona jest powietrzem.

	30
	Kompresor
	Urządzenie musi być wyposażone w kompresor powietrzny o parametrach odpowiednich do prawidłowego funkcjonowania systemu.

	31
	Zewnętrzny panel operacyjny
	Pozwalający na regulację podstawowych, często używanych parametrów i funkcji, takich jak: ostrość, powiększenie, jasność, kontrast, korekcja astygmatyzmu

	32
	Monitory


	System mikroskopu musi być wyposażone w co najmniej 3 monitory LCD, kolorowe, o przekątnej minimum 24 cale 

	33
	Komputer sterujący 
	Wyposażony w system operacyjny co najmniej  MS Windows 10 lub równoważny zapewniający płynną i bezproblemową pracę Urządzenia przy korzystaniu z dedykowanego oprogramowania wraz z odpowiednimi bezterminowymi licencjami na użytkowanie. Komputer powinien być wyposażony w napęd optyczny DVD+/- R/RW

	34
	Urządzenie musi być wyposażone w układ do precyzyjnego podawania gazu roboczego (GIS)
	Urządzenie musi być wyposażone w układ do precyzyjnego podawania gazu roboczego (GIS), pozwalający na wyzwalaną wiązką elektronową lub wiązką jonową depozycję platyny (Pt) oraz węgla (C). Kąt jaki tworzy dysza podająca gaz roboczy z osią kolumny elektronowej nie może być większy niż 65 stopni . Wymagana jest przy tym możliwość późniejszej rozbudowy instrumentu o możliwość stosowania co najmniej 2 kolejnych gazów roboczych. Układ punktowego podawania gazu musi być sterowany z poziomu głównego interfejsu użytkownika mikroskopu. 

	35
	Urządzenie musi być wyposażone w mikromanipulator pozwalający na preparatykę próbek TEM (przenoszenie cienkich folii na dedykowane siatki TEM) charakteryzujący się wysoką precyzją działania 
	Wymagane:

- zakres ruchu w osi Z nie mniejszy niż 10 mm

- minimalny krok przesuwu igły ≤200nm. 



	36
	Kolumna jonowa (FIB - Focused Ion Beam) 
	Urządzenie musi być wyposażone w kolumnę jonową (FIB - Focused Ion Beam) o następujących parametrach:

a) napięcie przyspieszające regulowane w zakresie co najmniej od 500V do 30kV

b) prąd wiązki jonowej regulowany co najmniej w zakresie od 1 pA do 60 nA

c) zdolność rozdzielcza: nie gorsza niż:

· 4 nm przy napięciu przyspieszającym 30 kV

· ≤ 60 nm przy napięciu przyspieszającym 2 kV

· ≤ 130 nm przy napięciu przyspieszającym 1 kV

d) Kolumna jonowa musi być wyposażona w elektroniczny beam blanker

e) Kąt jaki tworzy wiązka jonów z wiązką elektronów nie może być większy niż 60 stopni i musi umożliwiać podgląd w SEM podczas preparatyki wiązką jonów

	37
	Oprogramowanie do automatycznego wycinania i pocieniania lamelek
	Mikroskop musi być wyposażony w oprogramowanie umożliwiające automatyczne (bez ingerencji operatora) wycinanie i pocienianie lamelek (preparatów do mikroskopii transmisyjnej) zintegrowane z kolumną FIB, mikromanipulatorem, systemem podawania gazu roboczego i stolikiem mikroskopu

	38
	Oprogramowanie do wykonywania wysokorozdzielczych zdjęć z dużych obszarów próbki
	Mikroskop musi być wyposażony w  oprogramowanie umożliwiające akwizycję wysokorozdzielczych zdjęć wielkoformatowych, otrzymanych po złożeniu (stitching) pojedynczych obrazów z wykorzystaniem automatycznego przesuwu stolika, zebranych z dowolnego wskazanego obszaru próbki – w tym także na siateczkach TEM. Oprogramowanie musi zbierać pojedyncze obrazy składowe z wykorzystaniem wszystkich oferowanych detektorów (elektronów SE, BSE), a następnie łączyć i nakładać je na siebie. Oprogramowanie musi posiadać wersję do użytku offline;

	39
	Urządzenie do neutralizacji dodatniego potencjału na próbce podczas prac z kolumną FIB


	Mikroskop musi być wyposażony w urządzenie do neutralizacji dodatniego potencjału na próbce podczas prac z kolumną FIB spełniające minimalne wymagania: 

- źródło elektronów o energii minimum 150 eV

- prąd wiązki minimum 1 µA

	40
	Urządzenie musi być wyposażone w rentgenowski spektrometr (mikroanalizator) EDS
	Mikroskop musi być wyposażony w rentgenowski spektrometr (mikroanalizator) EDS spełniający następujące wymagania:

a. fabrycznie nowy układ spektrometru EDS powinien być konstrukcyjnie (sprzętowo i programowo) przystosowany do współpracy z układem mikroskopu SEM/FIB,

b. Wysuwany na ramieniu detektor EDS powinien być wyprodukowany w technice SDD i nie wymagać ciekłego azotu do chłodzenia,

c. Układ spektrometru EDS powinien umożliwiać detekcję pierwiastków minimum od Berylu (Be) wzwyż,

d. Detektor SDD spektrometru EDS powinien posiadać zdolność rozdzielczą 127 eV lub lepszą (specyfikowaną dla linii Mn Kα),

e. Detektor EDS musi posiadać okienko wykonane z krzemu azotku - Si3N4 i umożliwić detekcję minimum linii Al (Lα) (73 eV),

f. Spektrometr EDS powinien charakteryzować się powierzchnią elementu aktywnego co najmniej 30 mm2,

g. Detektor EDS powinien zapewnić maksymalną pracę przy minimum 1 000 000 wejściowych zliczeń na sekundę,

h. Detektor EDS musi umożliwić mapowanie składu pierwiastkowego, przy czym każdy piksel musi przechowywać pełne widmo EDS. Retrospektywnie z uzyskanej mapy musi być możliwość ekstrakcji widm sumarycznych ze zdefiniowanych przez użytkownika obszarów o dowolnym kształcie oraz tworzenia profili liniowych,

i. Spektrometr EDS powinien mieć możliwość zbierania, analizy i zapisu widm rentgenowskich punktowo, wzdłuż dowolnie prowadzonej linii (profil liniowy) oraz uzyskiwać mapy rozkładu pierwiastków z wyznaczonego obszaru wraz z automatyczną kompensacją dryfu,

j. Oprogramowanie detektora EDS powinno zapewnić analizę (na żywo i retrospektywnie) obejmującą odejmowanie tła, dekonwolucję linii spektralnych i analizę ilościową widma w każdym pikselu mapy i profilu liniowego
k. Oprogramowanie detektora EDS musi pracować w środowisku Windows 10 lub równoważnym

	41
	Urządzenie musi być wyposażone w systemów do dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD)
	Mikroskop musi być wyposażony w systemów do dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) spełniający następujące wymagania:

a. system EBSD musi być wyposażony w wysokoczułą kamerę CCD lub CMOS chłodzoną układem Peltiera, która umożliwia zbieranie monochromatycznych obrazów dyfrakcyjnych o rozdzielczości nie mniejszej niż 640x480 pikseli o 12 bitowej skali szarości,

b. szybkość odczytu detektora EBSD musi być nie mniejsza niż 1000 zaindeksowanych wzorów na sekundę, a precyzja orientacji nie może być gorsza niż 0,1 stopnia,

c. detektor EBSD powinien cechować się wzmocnieniem sygnału w zakresie sterowania minimum od 0 do +35 dB,

d. detektor EBSD musi być wyposażony w czujnik zapobiegający zderzeniu z próbką w komorze mikroskopu oraz detektor typu FSD (Forward Scatter Detector System),

e. system EBSD musi być wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do przejęcia kontroli nad wiązką elektronową mikroskopu za pośrednictwem własnego generatora skanu oraz umożliwiać import obrazów SE, BSE i widma z detektora EDS. Ustawienia kamery EBSD mogą dostosować się do parametrów pracy detektora EDS,

f. system EBSD musi posiadać funkcję automatycznej korekcji dryftu wiązki elektronowej i stolika goniometrycznego w czasie długotrwałej równoczesnej akwizycji map rozkładu pierwiastków (EDS) i map orientacji krystalograficznych,

g. system EBSD musi być wyposażony w osprzęt i oprogramowanie niezbędne do akwizycji i analizy map orientacji krystalograficznych oraz do prowadzenia pełnej identyfikacji faz,

h. dostarczony w komplecie komputer powinien być dedykowany do obsługi oprogramowania sterującego i powinien umożliwiać wykorzystanie możliwości detektora EBSD

	42
	Oprogramowanie sterujące kamerą EBSD
	Oprogramowanie sterujące kamerą EBSD musi:

a. pozwalać na pracę w środowisku 64-bitowego systemu operacyjnego MS Windows 10 lub równoważnego;

b. posiadać możliwość charakteryzacji mikrostruktury materiału bez wykonania pełnej mapy EBSD, kompatybilnej dla różnego rodzaju próbek m im. polimerów, ceramiki czy stopów metali;

c. umożliwiać akwizycję i analizę obrazów dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych;

d. umożliwiać wybór dowolnego obszaru skanowania dla uzyskania map orientacji krystalograficznych poprzez zaznaczenie obszaru w polu obrazu mikroskopowego, kształt obszaru skanowania może być dowolnej wielkości (w obszarze liniowym);

e. umożliwiać wskaźnikowanie wszystkich układów krystalicznych i grup przestrzennych;

f. zawierać wszechstronny pakiet funkcji analizy zebranych map orientacji krystalograficznych;

g. powinno zawierać zintegrowany edytor plików z referencyjnymi danymi dyfrakcji elektronowej dla różnych materiałów, z możliwością wprowadzania stałych sieci symetrii i położeń atomów oraz budowania własnej bazy danych dyfrakcji elektronowej;

h. zawierać bibliotekę indexów EBSD z co najmniej 480 wpisami;

i. system indeksowania faz oparty o dopasowanie minimum 3 przylegających ze sobą płaszczyzn;

j. informować o dopasowaniu rozwiązania indeksacji w każdym punkcie;

k. możliwość szybkiego podglądu dyfrakcji i jej zindeksowania z każdego miejsca na zapisanym obrazie elektronowym, poprzez wskazanie punktu przy pomocy myszy komputerowej bez konieczności wykonania pełnej mapy EBSD na całym obszarze;



	43
	Zasilanie
	Urządzenie musi być przystosowane do zasilania sieciowego 230 V/50Hz

	44
	Zasilanie awaryjne mikroskopu
	Do urządzenia musi zostać dołączony automatyczny układ zabezpieczeń mikroskopu na wypadek awarii zasilania, spadku napięcia, w postaci UPS’a z filtrami, zapewniający podtrzymanie zasilania Urządzenia do minimum 15 minut;

Układ zasilania awaryjnego musi posiadać zestaw wszystkich potrzebnych przewodów do połączeń, o długości wystarczającej do podłączenia mikroskopu na odległości co najmniej 5 m.

	45
	Dedykowane biurko do pracy przy mikroskopie wraz z fotelem dla operatora
	Wymagane

	46
	Gwarancja 
	Minimum 24 miesiące od daty podpisania bezwarunkowego protokołu odbioru;

Wykonawca pokrywa  koszty części zamiennych  oraz usługi: robocizny, dojazdów oraz noclegów autoryzowanego serwisu producenta

	47
	Dostawa, Instalacja, uruchomienie, testowanie systemu wraz z podukładami i szkolenie użytkowników wskazanych przez Zamawiającego zawarte w cenie
	Wymagane

	48
	Urządzenie musi być dostarczone w stanie gotowym do pracy bez konieczności kupna dodatkowych przystawek, okablowania, licencji, urządzeń niezbędnych do jego uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania.
	Wymagane;

Mikroskop musi zawierać zestaw wszystkich potrzebnych przewodów (kabli elektrycznych, światłowodowych i innych) do połączeń, o długościach wystarczających do podłączenia mikroskopu, kompresora, systemu chłodzenia i UPS.

	49
	Urządzenie musi być wyposażone w system do zdalnej diagnostyki i analizy stanu urządzenia za pośrednictwem sieci Internet, co wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do zdiagnozowania i usunięcia usterek oraz pozwoli również na skrócenie czasu przestoju urządzenia do niezbędnego minimum
	Wymagane

	50
	Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia testu akceptacyjnego.

	W ramach testu akceptacyjnego w miejscu instalacji Urządzenia zostaną przeprowadzone następujące testy:

1.        Sprawdzenie poprawności działania wszystkich układów i elementów Urządzenia poprzez przeprowadzenie testów sprawdzających według norm producenta.

2.
Test zdolności rozdzielczej obrazowania wiązką elektronową.

a.
Zdolność rozdzielcza obrazowania w modzie elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym 15 kV na standardowej próbce ziaren złota na węglu nie może być gorsza niż 0,7 nm. 

Test : Pomiar rozdzielczości na próbce złota na podłożu węglowym (preparat dla potrzeb testu zapewnia Wykonawca)

b.
Zdolność rozdzielcza obrazowania w modzie elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym 1 kV na standardowej próbce ziaren złota na węglu nie może być gorsza niż 1,5 nm.  

Test : Pomiar rozdzielczości na próbce złota na podłożu węglowym (preparat dla potrzeb testu zapewnia Wykonawca)

c.     Zdolność rozdzielcza obrazowania w modzie elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym 500 V na standardowej próbce ziaren złota na węglu nie może być gorsza niż 1,5 nm.  

Test : Pomiar rozdzielczości na próbce złota na podłożu węglowym (preparat dla potrzeb testu zapewnia Wykonawca)

d.     Zdolność rozdzielcza obrazowania w modzie STEM (podpróbkowym) przy napięciu przyspieszającym 30 kV nie może być gorsza niż 0,7 nm.  

Test : Pomiar rozdzielczości na preparacie transmisyjnym (preparat dla potrzeb testu zapewnia Wykonawca)

3. Test rozdzielczości obrazowania wiązką jonów: 

a. Zdolność rozdzielcza układu FIB definiowana jako zdolność rozdzielcza obrazowania w modzie elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym wiązkę jonów 30 kV na standardowej próbce grafitu nie może być gorsza niż 4 nm. Test : Pomiar rozdzielczości na próbce grafitu (preparat dla potrzeb testu zapewnia Wykonawca)

b. Zdolność rozdzielcza układu FIB definiowana jako zdolność rozdzielcza obrazowania w modzie elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym wiązkę jonów 2 kV na standardowej próbce grafitu nie może być gorsza niż 60 nm. Test : Pomiar rozdzielczości na próbce grafitu (preparat dla potrzeb testu zapewnia Wykonawca)

c. Zdolność rozdzielcza układu FIB definiowana jako zdolność rozdzielcza obrazowania w modzie elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym wiązkę jonów 1 kV na standardowej próbce grafitu nie może być gorsza niż 130 nm. Test : Pomiar rozdzielczości na próbce grafitu (preparat dla potrzeb testu zapewnia Wykonawca)

4.
Test rozdzielczości energetycznej systemu EDS:

 Pomiar rozdzielczości na próbce Mn. Detektor SDD spektrometru EDS musi posiadać zdolność rozdzielczą 127 eV lub lepszą (specyfikowaną dla linii Mn Kα) (preparat dla potrzeb testu zapewnia Wykonawca)

Wykonawca musi zapewnić warunki i materiały niezbędne do przeprowadzenia testów.

	51
	Instrukcja obsługi
	Instrukcja obsługi mikroskopu i wszystkich podzespołów (EDS, EBSD, FIB, GIS, mikromanipulator, układ chłodzący, kompresor, oraz pozostałe) w języku polskim lub angielskim. Obsługa wszystkich elementów Urządzenia/systemów musi być możliwa przy wykorzystaniu języka polskiego lub angielskiego (dotyczy to w szczególności opisu elementów sterujących na konsolach, klawiaturze, urządzeniach itd.).

	52
	Pełne szkolenie z zakresu obsługi wszystkich elementów systemu oraz szkolenie aplikacyjne w zakresie wysokorozdzielczego obrazowania na mikroskopie dla co najmniej 4 osób, w laboratorium Zamawiającego po instalacji
	Wymagane 6 dni szkolenia aplikacyjnego w dwóch turach po 3 dni w odstępie ok. 3 miesięcy

	53
	Dodatkowe szkolenie z zakresu obsługi układu EDS i EBSD oraz szkolenie aplikacyjne, dla co najmniej 4 osób, w laboratorium Zamawiającego
	Wymagane 

	54
	Zewnętrzne urządzenie do napylania cienkich warstw przewodzących (węgiel i ciężki metal)
	Urządzenie musi mieć możliwość napylania metodą jonowego rozpylania metalami szlachetnymi oraz ewaporacyjnego napylania węgla wykorzystując wymienne głowice

- Urządzenie musi być wyposażone w automatyczną przesłonę, która będzie chroniła preparat przed niekorzystnymi efektami przed rozpoczęciem procesu napylania dla wszystkich rodzajów głowic;

- Urządzenie musi być wyposażone w próżniową pompę wytwarzającą maksymalną próżnię o ciśnieniu nie większym niż 2x10-5 mbar.

- Urządzenie musi posiadać zintegrowany panel dotykowy do obsługi i zmiany parametrów procesu. Wyświetlacz jednocześnie powinien wskazywać przynajmniej podstawowe dane parametry procesu napylania  takie jak: wielkość próżni, status pracy itp.;

- Urządzenie musi być wyposażone w układ do pomiaru grubości napylonej warstwy w czasie rzeczywistym przy pomocy wagi kwarcowej z dokładnością poniżej 1 nm. Waga kwarcowa musi być umieszczona na stoliku z próbkami. Urządzenie musi posiadać możliwość umieszczenia wagi kwarcowej w minimum 2 miejscach w zależności od wielkości próbek – na środku stolika oraz na jego krawędzi.  

- Oprogramowanie musi umożliwiać w pełni automatyczny proces napylania tj. odpompowania, przepłukania argonem i stabilizacji plazmy (dla napylania metalami), otwarcia przysłony głowicy, napylenia zadanej grubości lub napylania określonego zadanym czasem trwania procesu, „zapowietrzenia” (lub pozostawienie pod próżnią);

- Urządzenie musi umożliwiać zdefiniowanie zakończenia trwania procesu na podstawie określenia przez użytkownika maksymalnego czasu napylania lub żądanej grubości napylanej warstwy;




2. Tabela wymagań dodatkowych punktowanych mikroskopu SEM/FIB

	Lp.
	
Elementy wyposażenia i parametry techniczne (zarówno samego Urządzenia, jak i elementów wyposażenia dodatkowego)
	Wymagania dodatkowe, jakie powinno spełniać zamawiane Urządzenie
	Dodatkowe punkty
	Tak/nie

-podać oferowane parametry-

	Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z wyposażeniem



	1
	Pierścieniowy detektor elektronów wstecznie rozproszonych – 10 pkt
	Detektor elektronów wstecznie rozproszonych z podziałem na 4 lub więcej niezależnych pierścieni z podziałem zewnętrznych pierścieni na co najmniej 3 niezależne sektory. Pierścienie detektora mają być rozmieszczone koncentrycznie względem siebie i muszą wykazywać selektywne obrazowanie kontrastu materiałowego i topografii powierzchni badanej próbki w zależności od napięcia i kąta rozproszenia elektronów BSE względem wiązki pierwotnej. Sektory detektora muszą umożliwiać obrazowanie powierzchni z różnych stron, a tym samym pozwalają na uzyskanie informacji 3D. Przez słowo „niezależne” rozumie się możliwość odczytu sygnału z każdego pierścienia jednocześnie i z każdego sektora jednocześnie. Detektor musi mieć czułość wystarczającą na obrazowanie BSE przy energiach od 700 eV bez użycia polaryzacji stolika.

Detektor powinien być zamontowany na ruchomym, automatycznie wsuwanym ramieniu pozwalającym na umieszczenie detektora pod nabiegunnikiem (wymagane sterowane z poziomu głównego oprogramowania sterującego pracą mikroskopu)
	3 pkt
	

	2
	Niskie rozmycie energetyczne wiązki elektronowej
	Konstrukcja mikroskopu gwarantuje rozmycie energetyczne wiązki elektronowej poniżej 0,25 eV dla energii wiązki elektronowej w zakresie minimum od 200 V – 3 kV
	3 pkt
	

	3
	Wielosektorowy detektor elektronów przechodzących (STEM) wraz ze stolikiem
	Automatycznie wsuwany detektor elektronów przechodzących przez próbkę (STEM) z podziałem na minimum 11 sektorów na które składają się:

- sektor pola jasnego BF,

- minimum 4 sektory pola ciemnego DF w postaci koncentrycznych pierścieni,

- minimum 6 sektorów szerokokątowego pola ciemnego HAADF uruchamianych niezależnie lub mogących utworzyć pełen pierścień.
Detektor zintegrowany z oprogramowaniem głównym mikroskopu pozwalającym na ustawienie i zapisanie parametrów skanowania do sekwencyjnego obrazowania na wszystkich sektorach detektora.  


	5 pkt
	

	4
	Potrójny układ detekcji wewnątrzkolumnowej
	Układ detekcji wewnątrzkolumnowej zawierający trzy detektory i umożliwiający ich jednoczesny odczyt (przy pojedynczym skanie wiązką) w tym obrazowanie BSE na każdym detektorze jednocześnie
	3 pkt
	

	5
	Osłona kolumny elektronowej do pracy z wysokimi prądami FIB


	Specjalna osłona (shutter) wprowadzana przy pracy z kolumną jonową, sterowana z oprogramowania głównego mikroskopu, zabezpieczająca detektory in-lens podczas długotrwałej pracy z kolumną FIB oraz GIS przy wysokich prądach.
	3 pkt
	

	6
	Mikromanipulator do precyzyjnego wyciągania i przenoszenia lamelek
	Mikromanipulator sterowany z głównego oprogramowania mikroskopu w pełni współpracujący z automatycznym programem do wycinania lamelek oraz posiadający cechy:

- osie ruchu manipulatora są powiązane z obrazami SEM i FIB

- automatyczna rotacja igły manipulatora w zakresie 360° ° przy czym przesunięcie igły nie może być większe niż 5 µm wzdłuż żadnej osi przy obrocie o 180°.

- zautomatyzowane oprogramowanie do wyciągania lamelek TEM musi automatycznie ustawić końcówkę mikromanipulatora w odległości nie większej niż 3 µm od krawędzi lamelki lub siatki TEM 

- powtarzalność ruchów igły mikromanipulatora we wszystkich osiach nie może być gorsza niż 160 nm, 

- minimalny krok przesuwu igły ≤60nm,

- dryf igły <60 nm/min
	6 pkt
	

	7
	Zdolność rozdzielcza obrazowania wiązką jonów FIB 
	Zdolność rozdzielcza obrazowania wiązką jonów FIB przy napięciu przyspieszającym 2 kV nie gorsza niż 40 nm wykazana w miejscu instalacji na próbce grafitu.
	7 pkt
	

	8
	Zdolność rozdzielcza obrazowania wiązką jonów FIB 
	Zdolność rozdzielcza obrazowania wiązką jonów FIB przy napięciu przyspieszającym 1 kV nie gorsza niż 90 nm wykazana w miejscu instalacji na próbce grafitu.
	7 pkt
	

	9
	Sterowanie zintegrowanym z komorą SEM urządzeniem do czyszczenia plazmowego (plasma cleaner)
	Sterowanie urządzeniem musi być realizowane z poziomu głównego oprogramowania sterującego pracą mikroskopu. Uruchomienie procesu czyszczenia plazmowego musi odbywać się w sposób automatyczny bez ingerencji operatora. Oprogramowanie mikroskopu musi automatycznie wysuwać z komory detektory BSE, STEM, automatycznie wyłączać wiązkę elektronową oraz w bezpieczny sposób zwalniać pompę turbo do osiągnięcia odpowiedniego ciśnienia w komorze.
	3 pkt
	

	10
	Zdolność rozdzielcza obrazowania SEM w modzie SE przy 1 kV 
	Zdolność rozdzielcza obrazowania SEM w modzie SE przy napięciu przyspieszającym 1 kV ≤ 0,7 nm wykazana w miejscu instalacji na próbce ziaren złota na węglu  
	5 pkt
	

	11
	Zdolność rozdzielcza obrazowania SEM w modzie SE przy 500 V 
	Zdolność rozdzielcza obrazowania SEM w modzie SE przy napięciu przyspieszającym 500 V ≤1 nm wykazana w miejscu instalacji na próbce ziaren złota na węglu  
	5 pkt
	

	12
	Generator skanu
	Wyposażenie mikroskopu w generator skanu umożliwiający skanowanie przeplatane, co wybraną zdefiniowaną przez użytkownika linię celem minimalizacji ładowania się próbki
	3 pkt
	

	13
	Układ automatycznego justowania kolumny elektronowej i kolumny jonowej mikroskopu
	Układ automatycznego justowania kolumny elektronowej i kolumny jonowej mikroskopu
	2 pkt
	


3. Dyfraktometr rentgenowski

	Lp.
	
Elementy wyposażenia i parametry techniczne (zarówno samego Urządzenia, jak i elementów wyposażenia dodatkowego)
	Wymagania minimalne, jakie powinno spełniać zamawiane Urządzenie

	1
	Generator
	Zasilanie 220-230v/50Hz, moc > 2 kW, napięcie przyśpieszające min. zakres 20 – 50 kV, regulowane 1 kV, natężenie prądu min. zakres 5 – 50 mA, regulowane co 1 mA. 

	2
	Lampa rentgenowska
	· Moc lampy min. 2 kW

· Ceramiczna lampa rentgenowska z anodą Cu o długim wąskim ognisku typu: long fine focus, 

	3
	Osłona
	Obudowa przeciwradiacyjna spełniająca normy europejskie w zakresie promieniowania jonizującego poniżej 1µSv/h w odległości pomiędzy 10cm a 15cm od obudowy.

	4
	Goniometr
	· Pionowy w konfiguracji Theta/Theta,

· Zakres kątów 2θ co najmniej: -10 -- +160

· Powtarzalność ustawienia nie gorsza niż +/- 0,0001°,

· Krok pomiarowy regulowany od wartości minimalnej nie mniejszej niż 0,0001°,

· Wyposażony w silniki krokowe z optycznymi enkoderami,

Automatyczny czujnik kolizji oraz kontroli konfliktu elementów błędnie zainstalowanych.

	5
	Optyka wiązki
	· Automatyczne rozpoznawanie elementów układu w czasie rzeczywistym,

· Zespół automatycznej szczeliny dywergencji wraz ze szczeliną Sollera dla wiązki pierwotnej umożliwiające współpracę z detektorem energodyspersyjnym,

· Zwierciadło paraboliczne dające wiązkę równoległą wiązki pierwotnej dla promieniowania Cu,

· Zespół szczelin dla wiązki wtórnej do geometrii wiązki poślizgowej (Grazing incidence GID) umożliwiające współpracę z detektorem energodyspersyjnym.

	6
	Detektor
	· Bezobsługowy, szybki licznik energodyspersyjny wykonany w technologii paskowej, pracujący w trybie 0D, 1D wraz z elektroniką kontrolno-pomiarową bez martwych pasków i obszarów wyłączonych,

· W pełni automatyczne rozpoznawanie i konfiguracja detektora w czasie rzeczywistym

	7
	Stolik
	Standardowy, obrotowy stolik na próbki pracujący w geometrii odbiciowej umożliwiający montaż przystawki do pomiarów wysokotemperaturowych i instalację próbek o wymiarach co najmniej 30x30 mm i 20 mm wysokości

	8
	Przystawka do pomiarów wysokotemperaturowych
	· Automatyczne rozpoznawanie komory temperaturowej w czasie rzeczywistym,

· Zakres temperaturowy: od RT (temperatura pokojowa) do 1200 °C.

· Możliwość wykonywania pomiarów w geometrii GID

· Komora umożliwiająca pomiary w atmosferze gazu obojętnego.

	9
	Oprogramowanie


	· Program sterujący pracą dyfraktometru i zbierający dane spełniające następujące funkcje: 

· Alarm powiadomienia o możliwości kolizji przy błędnych komendach,

· Kontrola i wykrywanie błędów konfiguracji, propozycja geometrii pomiaru

· Automatyczne uruchamianie lampy rentgenowskiej w celu zapewnienia maksymalnej żywotności oraz automatyczna procedura wygrzewania nowej lampy rentgenowskiej,

· Graficzna reprezentacja przyrządu do wyświetlania w czasie rzeczywistym aktualnej konfiguracji przyrządu w oparciu o rozpoznawanie części, walidację w czasie rzeczywistym i wykrywanie konfliktów oraz planowanie pomiarów.

· Program do analizy fazowej – 10 licencji stanowiskowych.

	10
	Układ chłodzenia
	Zamknięty układ chłodzenia woda-powietrze o mocy chłodzącej dostosowany do oferowanego urządzenia

	11
	Układ zasilania gazem
	Kompletny układ zapewniający przepływ gazu obojętnego w komorze do pomiarów wysokotemperaturowych

	12
	Dodatkowe wyposażenie


	· Baza danych zawierająca min. 300 000 wpisów do szybkiej i dokładnej identyfikacji faz, obejmująca następujące klasy materiałów: metale i stopy, minerały ceramiczne, pigmenty i farby, substancje farmaceutyczne i polimery – licencja na 1 stanowisko komputerowe na okres min. 5 lat,

· Komputer kontrolno-pomiarowy do sterowania pracą dyfraktometru wraz z zainstalowanym oprogramowaniem aplikacyjnym,

· Oprogramowanie do edytowania wyników i tworzenia raportów – licencja na 1 stanowisko komputerowe, 

· Nośniki licencji USB – 3 szt.,

· Drukarka laserowa – 1 szt.,

· Certyfikowany materiał wzorcowy wymagany do pełnej kalibracji i justowania dyfraktometru.

	13
	Serwis


	Czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego najpóźniej do 5 dni roboczych tj. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin oraz ustalenia rodzaju usterki w ciągu 5 dni roboczych po zgłoszeniu wady (awarii) faksem lub e-mailem.

	14
	Dodatkowe wyposażenie
	Dedykowane narzędzia i elementy niezbędne dla montażu/demontażu podstawowych części wyposażenia, próbek oraz podstawowego serwisu 

	15
	Gwarancja 
	Minimum 24 miesiące od daty podpisania bezwarunkowego protokołu odbioru;

Wykonawca pokrywa  koszty części zamiennych  oraz usługi: robocizny, dojazdów oraz noclegów autoryzowanego serwisu producenta

	16
	Dostawa, Instalacja, uruchomienie, testowanie systemu wraz z podukładami i zawarte w cenie szkolenie użytkowników (min. 4 osób) wskazanych przez Zamawiającego
	Wymagane

· Instruktaż z zakresu użytkowania dyfraktometru i oprogramowania podczas montażu urządzenia,

· Szkolenie aplikacyjne (1 faza) w laboratorium Zamawiającego - 3 dni

· Druga faza szkolenia aplikacyjnego w laboratorium Zamawiającego po okresie min. 3 miesięcy od 1 fazy szkolenia

	17
	Dedykowane biurko do pracy przy mikroskopie wraz z fotelem dla operatora
	Wymagane

	18
	Urządzenie musi być dostarczone w jako fabrycznie nowe, w stanie gotowym do pracy bez konieczności kupna dodatkowych przystawek, okablowania, licencji, certyfikatów i innych urządzeń niezbędnych do jego uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania.
	Wymagane

Dyfraktometr musi zawierać zestaw wszystkich potrzebnych przewodów (kabli elektrycznych, światłowodowych, gazowych, złączek, reduktorów itp) o długościach wystarczających do podłączenia urządzenia w przewidzianym pomieszczeniu. 

	19
	Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia testu akceptacyjnego.

	W ramach testu akceptacyjnego w miejscu instalacji Urządzenia zostaną przeprowadzone następujące testy:

· Rejestracja widma na standardowej próbce polikrystalicznej

· Rejestracja widma na standardowej próbce proszkowej

· Rejestracja widma na standardowej próbce monokrystalicznej

· Rejestracja widma na próbce polikrystalicznej przy maksymalnej temperaturze pracy

· Rejestracja widma na próbce warstwowej w trybie GXRD (GID)

· Rejestracja widma na próbce warstwowej w trybie GXRD (GID) w wysokiej temperaturze

Wykonawca musi zapewnić warunki i materiały niezbędne do przeprowadzenia testów.

	20
	Instrukcja obsługi
	Instrukcja obsługi  dyfraktometru i jego wszystkich podzespołów (przystawka GXRD, przystawka wysokotemperaturowa, program sterujący, bazy danych itp) w języku polskim lub angielskim. Obsługa wszystkich elementów Urządzenia/systemów musi być możliwa przy wykorzystaniu języka polskiego lub angielskiego (dotyczy to w szczególności opisu elementów sterujących na konsolach, klawiaturze, urządzeniach itd.).

	21
	Certyfikaty i zezwolenia
	Wszystkie niezbędne certyfikaty i zezwolenia konieczne do legalnego użytkowania urządzenia (elektryczne, osłony radiacyjne itp.). 


4. Tabela wymagań dodatkowych punktowanych dla dyfraktometru rentgenowskiego

	Lp.
	
Elementy wyposażenia i parametry techniczne (zarówno samego urządzenia, jak i elementów wyposażenia dodatkowego)
	Dodatkowe punkty
	Tak/nie

-podać oferowane parametry-

	Dyfraktometr rentgenowski z opcją GXRD i przystawką do pomiarów wysokotemperaturowych



	1
	Jednomodułowy układ optyczny po stronie pierwotnej obejmujący zespół szczelin automatycznych i kryształ umożliwiający uzyskanie wiązki równoległej (np. zwierciadło Gobela), oraz jednomodułowy układ optyczny po stronie wtórnej obejmujący zespół szczelin automatycznych i szczelin Sollera, pozwalające na przełączanie między geometrią Bragga-Brentano, a geometrią wiązki równoległej z pozycji oprogramowania bez konieczności justowania urządzenia oraz fizycznej/manualnej wymiany komponentów.
	5 pkt


	

	2
	Rozdzielczość energetyczna detektora lepsza niż 400eV dla promieniowania Cu w temperaturze pokojowej 
	4 pkt
	

	3
	Przystawka do pomiarów wysokotemperaturowych umożliwiająca pomiary do 1600C z możliwością pomiarów w geometrii GID
	5 pkt 
	

	4
	Dodatkowe zawarte w cenie szkolenia aktualizujące raz na dwa lata
	1 pkt
	


Załącznik nr 2 do SIWZ

	……………………………………………………

……………………………………………………

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

……………………………………………………

(miejsce wykonywania działalności)
	……………………………………………………

(miejscowość i data)


FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Dostawę skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) i dyfraktometru rentgenowskiego w formie leasingu
składam niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją techniczną Przedmiotu Leasingu, stanowiącą Załącznik Nr 1 do SIWZ, za cenę całkowitą:
	CENA OFERTOWA NETTO
	..................................................................... złotych/euro (słownie: ......................................................................... ................................................................................. zł/EUR)

	VAT

	..................................................................... złotych/euro (słownie: ......................................................................... ................................................................................. zł/EUR)

	CENA OFERTOWA BRUTTO


	..................................................................... złotych/euro (słownie: ......................................................................... ................................................................................. zł/EUR)


2. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), w tym ze wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ.

4.  Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 

5. Oświadczam, że oferowany okres gwarancji wynosi ……………….. miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Leasingu).

6. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszej oferty zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

7. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.

8. Na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy PZP oświadczam, że wybór mojej oferty będzie prowadził / nie będzie prowadził (*) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Poniżej wykaz dostaw i usług, od których powstaje u Zamawiającego obowiązek podatkowy.

	Lp.
	Nazwa towaru lub usługi
	Wartość netto bez podatku VAT

	
	
	


9. Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać sam / przewiduję powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie (*)
	Lp.
	Nazwa podwykonawcy
	Część zamówienia, którą będzie realizował podwykonawca

	
	
	


10. Wadium o wartości .................... PLN (słownie: ................................................................. złotych) zostało wniesione w dniu ........................, w formie .................................................................. .

11. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach.

13. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. (*)
14. Oświadczam, że jestem mikro / małym / średnim (*) przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004r. Nr 173 poz. 1807). - TAK / NIE (*)

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
16. Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji:
Nazwa Firmy (**):  


Adres (**)……………..
...

tel. (**) 
, fax. (**) 


e-mail (**) …………………………………………………………

Dane osoby do kontaktu (**): …………………………………………………………………………..

17. Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1) Załącznik A do Formularza oferty
2) ……………………………………………...............................................................

3) ……………………………………………...............................................................
	
	.........................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)



(*) - niepotrzebne skreślić

(**) - w przypadku składania oferty wspólnej proszę podać dane ustanowionego pełnomocnika

Załącznik A do Formularza ofertowego

Specyfikacja techniczna skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM)  

i dyfraktometru rentgenowskiego

– tabela oferowanych parametrów technicznych 
1. Skaningowy mikroskop elektronowy: wymagania minimalne
	Lp.
	
Elementy wyposażenia i parametry techniczne (zarówno samego Urządzenia, jak i elementów wyposażenia dodatkowego)
	Wymagania minimalne, jakie powinno spełniać zamawiane Urządzenie
	Tak/nie

-podać oferowane parametry-

	1
	Źródło wiązki elektronów
	Działo elektronowe z zimną emisją polową lub działo elektronowe z termiczną emisją (emiter Schottky’ego)
	

	2
	Zdolność rozdzielcza obrazowania w modzie SE przy 15 kV
	Nie gorsza niż 0,7 nm (gwarantowana w miejscu instalacji)
	

	3
	Zdolność rozdzielcza obrazowania w modzie SE przy 1 kV
	Nie gorsza niż 1,5 nm (gwarantowana w miejscu instalacji)
	

	4
	Zdolność rozdzielcza obrazowania w modzie SE przy 500 V
	Nie gorsza niż 1,5 nm (gwarantowana w miejscu instalacji)
	

	5
	Zdolność rozdzielcza obrazowania w trybie BF STEM przy 30 kV
	Nie gorsza niż 0,7 nm 

(gwarantowana w miejscu instalacji)
	

	6
	Minimalny zakres energii elektronów osiągających próbkę
	100 eV – 30 keV
	

	7
	Minimalny zakres prądu wiązki


	Co najmniej od 5 pA do co najmniej 100 nA
	

	8
	Niezależna regulacja wartości napięcia przyspieszającego i prądu wiązki elektronowej
	Wymagana 
	

	9
	Urządzenie musi być wyposażone w układ do pomiaru prądu wiązki elektronowej i jonowej 
	Wymagane 
	

	10
	Wewnątrzkomorowy detektor elektronów wtórnych SE
	Wymagany
	

	11
	Detektor jonów wtórnych i elektronów wtórnych zoptymalizowany do pracy z kolumną jonową
	Wymagany 
	

	12
	Detektor elektronów wstecznie rozproszonych BSE
	Detektor elektronów wstecznie rozproszonych, z podziałem na minimum 3 sektory. Detektor musi być zamontowany na ruchomym, wsuwanym ramieniu pozwalającym na umieszczenie detektora pod nabiegunnikiem obiektywu. Wymagane sterowanie detektorem z poziomu głównego oprogramowania sterującego pracą mikroskopu;

Detektor musi być zoptymalizowany do pracy z jednoczesnym wykorzystaniem mikroanalizy EDS.
	

	13
	Detektory wewnątrzsoczewkowe
	Co najmniej 2 detektory wewnątrzsoczewkowe (wewnątrzkolumnowe „in-lens”) zapewniające precyzyjną detekcję elektronów wstecznie rozproszonych BSE, a także detekcję sygnału elektronów wtórnych SE. Detektory  rozmieszczone na różnych wysokościach kolumny elektronowej, aby zapewnić selekcję sygnałów SE i BSE w kolumnie mikroskopu
	

	14
	Detektor elektronów przechodzących (STEM)
	Detektor elektronów przechodzących przez próbkę (STEM) z podziałem na sektory umożliwiające obserwacje w polu jasnym (BF) i polu ciemnym (DF)


	

	15
	Urządzenie musi posiadać możliwość jednoczesnego zbierania sygnałów z co najmniej 4 detektorów, w tym możliwość uzyskania sygnału z 2 detektorów wewnątrzsoczewkowych jednocześnie
	Wymagane
	

	16
	Urządzenie musi mieć możliwość jednoczesnej obserwacji przynajmniej 4 żywych obrazów (przy pojedynczym skanie wiązką elektronów) z różnych detektorów na ekranie jednego monitora (np. dla celów porównawczych)
	Wymagane
	

	17
	Mikroskop musi posiadać funkcję automatycznej korekcji dryfu, aktywowaną np. w przypadku integracji wielu kolejnych ramek skanowania w ramach jednego obrazu
	Wymagane
	

	18
	Generator skanu
	Mikroskop musi być wyposażony w generator skanu umożliwiający:

a. integrację wielu ramek z automatyczną korekcją dryfu,

b. wielokrotne skanowanie pojedynczej linii ramki (integracja liniowa) celem poprawy stosunku sygnał/szum,


	

	19
	Podgląd wnętrza komory mikroskopu podczas pracy
	Wymagana co najmniej jedna kamera IR CCD z podświetlaniem (ang. IR-illumination) do podglądu wnętrza komory próbki;

Obraz z kamery wyświetlany na monitorze LCD.
	

	20
	Kamera do wstępnego obrazowania powierzchni preparatów umieszczonych na stoliku
	Wymagana kamera do wstępnego obrazowania powierzchni preparatów umieszczonych na stoliku. Wymagana kamera zintegrowana z obszarem komory mikroskopu, charakteryzująca się rozdzielczością co najmniej 5 megapikseli. Uzyskane obrazy muszą być w sposób automatyczny przypisywane do koordynat przesuwu stolika. Wymagana możliwość wykonania zdjęcia obejmującego pole widzenia preparatu.
	

	21
	Zmotoryzowany stolik eucentryczny
	Precyzyjny stolik próbki (działający w oparciu o elementy piezoelektryczne) o powtarzalności minimum 1,5 m o zmotoryzowanych przesuwach w 5-ciu osiach.

Zakresy przesuwów:

- w osi X nie mniejszy niż 150 mm,

- w osi Y nie mniejszy niż 150 mm,

- zakres przesuwu w osi Z nie mniejszy niż 10 mm,

- eucentryczny obrót wokół osi w zakresie 360 stopni dla wszystkich położeń X,Y,

- pochylanie w zakresie nie mniejszym niż od -10( do +59(
Stolik próbki powinien umożliwiać umieszczanie próbek lub akcesoriów o wadze co najmniej 500g 
	

	22
	Komora preparatu
	Wymagana szerokość komory nie mniejsza niż 300 mm

Wymagane co najmniej 15 portów w komorze
	

	23
	Śluza do szybkiej wymiany próbki 


	Wymagana;


	

	24
	Wymiary próbki przechodzącej przez śluzę


	Średnica: co najmniej 30 mm

Wysokość: co najmniej 10 mm
	

	25
	Uchwyty umożliwiające zamontowanie próbek
	Urządzenie musi być wyposażone w następujące uchwyty:

· uchwyt do zamocowania jednocześnie wielu (co najmniej 5) standardowych stolików okrągłych o średnicy 12,7 mm;

· stoliki okrągłe o średnicy 12,7 mm z jedną nóżką;

· uchwyt próbek dedykowany dla detektora STEM (BF i DF) pozwalający na umieszczenie jednocześnie minimum 6 siateczek TEM;

· uchwyt dedykowany do preparatyki FIB lift-out pozwalający na umieszczenie jednocześnie minimum 4 siateczek TEM; 

· uchwyt dedykowany do pomiarów EBSD (obserwacja przy 70( pochylenia);

· uchwyt dedykowany do obserwacji przełomów próbek (obserwacja przy 90( pochylenia);
	

	26
	Oprogramowanie sterujące pracą mikroskopu
	Oprogramowanie sterujące pracą mikroskopu musi umożliwiać:

-automatyczną korekcję astygmatyzmu,

-automatyczne ustawienie ostrości obrazu,

-automatyczne ustawienie jasności i kontrastu obrazu,

-ustawienie parametrów urządzenia takich jak: powiększenie, energia elektronów pierwotnych osiągających próbkę, wybór trybu obrazowania,

-akwizycję, zapisywanie (wraz z zestawem wszystkich parametrów pracy mikroskopu) i obróbkę obrazu o rozdzielczości minimum 25 megapikseli w co najmniej następujących przyjętych standardach: TIFF, BMP i JPEG w skali szarości nie mniej niż 16 bitów,

- rejestrację sekwencji video w formacie .avi,

- interaktywne pomiary odległości, pól powierzchni i kątów bezpośrednio na ekranie monitora z automatycznym zapisem rezultatów pomiaru;

Oprogramowanie sterujące mikroskopu i wszystkie aplikacje specjalistyczne, występujące w oferowanym instrumencie powinny być uruchamiane w systemie operacyjnym MS Windows 10 lub równoważny i kompatybilne z innymi standardowymi programami środowiska Microsoft Windows.

Oprogramowanie mikroskopu musi pozwolić na zapisanie jednocześnie zarejestrowanych obrazów przy użyciu przyrostowej nazwy pliku, przy czym wszystkie zapisane w danym momencie obrazy będą mieć taką samą przyrostową liczbą i inny zdefiniowany przez użytkownika prefiks.

Wykonawca przeprowadzać będzie bezpłatną aktualizację oprogramowania sterującego mikroskopem w ciągu 5 lat od daty instalacji w miejscu instalacji mikroskopu.
	

	27
	Urządzenie do czyszczenia plazmowego
	Zintegrowane z komorą SEM urządzenie do czyszczenia plazmowego (plasma cleaner) pozwalające na oczyszczenie powierzchni preparatu niskoenergetyczną plazmą, bez konieczności wyjmowania próbki z mikroskopu. 
	

	28
	Bezolejowy system próżniowy
	Wyposażony w bezolejową pompę próżni wstępnej, pompę turbomolekularną oraz minimum dwie pompy jonowe lub równoważny;

Wyposażony w układ do automatycznego przepłukiwania czystym azotem komory mikroskopu sterowany przez komputer.
	

	29
	Układ chłodzenia
	Urządzenie musi być wyposażone w zamknięty układ chłodzenia wodnego (ang. chiller) zapewniające stabilną pracę całego systemu mikroskopu:

d) zamknięty układ chłodzenia,

e) zdalnie kontrolowany przez mikroskop,

f) woda chłodzona jest powietrzem.
	

	30
	Kompresor
	Urządzenie musi być wyposażone w kompresor powietrzny o parametrach odpowiednich do prawidłowego funkcjonowania systemu.
	

	31
	Zewnętrzny panel operacyjny
	Pozwalający na regulację podstawowych, często używanych parametrów i funkcji, takich jak: ostrość, powiększenie, jasność, kontrast, korekcja astygmatyzmu
	

	32
	Monitory


	System mikroskopu musi być wyposażone w co najmniej 3 monitory LCD, kolorowe, o przekątnej minimum 24 cale 
	

	33
	Komputer sterujący 
	Wyposażony w system operacyjny co najmniej  MS Windows 10 lub równoważny zapewniający płynną i bezproblemową pracę Urządzenia przy korzystaniu z dedykowanego oprogramowania wraz z odpowiednimi bezterminowymi licencjami na użytkowanie. Komputer powinien być wyposażony w napęd optyczny DVD+/- R/RW
	

	34
	Urządzenie musi być wyposażone w układ do precyzyjnego podawania gazu roboczego (GIS)
	Urządzenie musi być wyposażone w układ do precyzyjnego podawania gazu roboczego (GIS), pozwalający na wyzwalaną wiązką elektronową lub wiązką jonową depozycję platyny (Pt) oraz węgla (C). Kąt jaki tworzy dysza podająca gaz roboczy z osią kolumny elektronowej nie może być większy niż 65 stopni . Wymagana jest przy tym możliwość późniejszej rozbudowy instrumentu o możliwość stosowania co najmniej 2 kolejnych gazów roboczych. Układ punktowego podawania gazu musi być sterowany z poziomu głównego interfejsu użytkownika mikroskopu. 
	

	35
	Urządzenie musi być wyposażone w mikromanipulator pozwalający na preparatykę próbek TEM (przenoszenie cienkich folii na dedykowane siatki TEM) charakteryzujący się wysoką precyzją działania 
	Wymagane:

- zakres ruchu w osi Z nie mniejszy niż 10 mm

- minimalny krok przesuwu igły ≤200nm. 


	

	36
	Kolumna jonowa (FIB - Focused Ion Beam) 
	Urządzenie musi być wyposażone w kolumnę jonową (FIB - Focused Ion Beam) o następujących parametrach:

f) napięcie przyspieszające regulowane w zakresie co najmniej od 500V do 30kV

g) prąd wiązki jonowej regulowany co najmniej w zakresie od 1 pA do 60 nA

h) zdolność rozdzielcza: nie gorsza niż:

· 4 nm przy napięciu przyspieszającym 30 kV

· ≤ 60 nm przy napięciu przyspieszającym 2 kV

· ≤ 130 nm przy napięciu przyspieszającym 1 kV

i) Kolumna jonowa musi być wyposażona w elektroniczny beam blanker

j) Kąt jaki tworzy wiązka jonów z wiązką elektronów nie może być większy niż 60 stopni i musi umożliwiać podgląd w SEM podczas preparatyki wiązką jonów
	

	37
	Oprogramowanie do automatycznego wycinania i pocieniania lamelek
	Mikroskop musi być wyposażony w oprogramowanie umożliwiające automatyczne (bez ingerencji operatora) wycinanie i pocienianie lamelek (preparatów do mikroskopii transmisyjnej) zintegrowane z kolumną FIB, mikromanipulatorem, systemem podawania gazu roboczego i stolikiem mikroskopu
	

	38
	Oprogramowanie do wykonywania wysokorozdzielczych zdjęć z dużych obszarów próbki
	Mikroskop musi być wyposażony w  oprogramowanie umożliwiające akwizycję wysokorozdzielczych zdjęć wielkoformatowych, otrzymanych po złożeniu (stitching) pojedynczych obrazów z wykorzystaniem automatycznego przesuwu stolika, zebranych z dowolnego wskazanego obszaru próbki – w tym także na siateczkach TEM. Oprogramowanie musi zbierać pojedyncze obrazy składowe z wykorzystaniem wszystkich oferowanych detektorów (elektronów SE, BSE), a następnie łączyć i nakładać je na siebie. Oprogramowanie musi posiadać wersję do użytku offline;
	

	39
	Urządzenie do neutralizacji dodatniego potencjału na próbce podczas prac z kolumną FIB


	Mikroskop musi być wyposażony w urządzenie do neutralizacji dodatniego potencjału na próbce podczas prac z kolumną FIB spełniające minimalne wymagania: 

- źródło elektronów o energii minimum 150 eV

- prąd wiązki minimum 1 µA
	

	40
	Urządzenie musi być wyposażone w rentgenowski spektrometr (mikroanalizator) EDS
	Mikroskop musi być wyposażony w rentgenowski spektrometr (mikroanalizator) EDS spełniający następujące wymagania:

l. fabrycznie nowy układ spektrometru EDS powinien być konstrukcyjnie (sprzętowo i programowo) przystosowany do współpracy z układem mikroskopu SEM/FIB,

m. Wysuwany na ramieniu detektor EDS powinien być wyprodukowany w technice SDD i nie wymagać ciekłego azotu do chłodzenia,

n. Układ spektrometru EDS powinien umożliwiać detekcję pierwiastków minimum od Berylu (Be) wzwyż,

o. Detektor SDD spektrometru EDS powinien posiadać zdolność rozdzielczą 127 eV lub lepszą (specyfikowaną dla linii Mn Kα),

p. Detektor EDS musi posiadać okienko wykonane z krzemu azotku - Si3N4 i umożliwić detekcję minimum linii Al (Lα) (73 eV),

q. Spektrometr EDS powinien charakteryzować się powierzchnią elementu aktywnego co najmniej 30 mm2,

r. Detektor EDS powinien zapewnić maksymalną pracę przy minimum 1 000 000 wejściowych zliczeń na sekundę,

s. Detektor EDS musi umożliwić mapowanie składu pierwiastkowego, przy czym każdy piksel musi przechowywać pełne widmo EDS. Retrospektywnie z uzyskanej mapy musi być możliwość ekstrakcji widm sumarycznych ze zdefiniowanych przez użytkownika obszarów o dowolnym kształcie oraz tworzenia profili liniowych,

t. Spektrometr EDS powinien mieć możliwość zbierania, analizy i zapisu widm rentgenowskich punktowo, wzdłuż dowolnie prowadzonej linii (profil liniowy) oraz uzyskiwać mapy rozkładu pierwiastków z wyznaczonego obszaru wraz z automatyczną kompensacją dryfu,

u. Oprogramowanie detektora EDS powinno zapewnić analizę (na żywo i retrospektywnie) obejmującą odejmowanie tła, dekonwolucję linii spektralnych i analizę ilościową widma w każdym pikselu mapy i profilu liniowego
v. Oprogramowanie detektora EDS musi pracować w środowisku Windows 10 lub równoważnym
	

	41
	Urządzenie musi być wyposażone w systemów do dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD)
	Mikroskop musi być wyposażony w systemów do dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) spełniający następujące wymagania:

i. system EBSD musi być wyposażony w wysokoczułą kamerę CCD lub CMOS chłodzoną układem Peltiera, która umożliwia zbieranie monochromatycznych obrazów dyfrakcyjnych o rozdzielczości nie mniejszej niż 640x480 pikseli o 12 bitowej skali szarości,

j. szybkość odczytu detektora EBSD musi być nie mniejsza niż 1000 zaindeksowanych wzorów na sekundę, a precyzja orientacji nie może być gorsza niż 0,1 stopnia,

k. detektor EBSD powinien cechować się wzmocnieniem sygnału w zakresie sterowania minimum od 0 do +35 dB,

l. detektor EBSD musi być wyposażony w czujnik zapobiegający zderzeniu z próbką w komorze mikroskopu oraz detektor typu FSD (Forward Scatter Detector System),

m. system EBSD musi być wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do przejęcia kontroli nad wiązką elektronową mikroskopu za pośrednictwem własnego generatora skanu oraz umożliwiać import obrazów SE, BSE i widma z detektora EDS. Ustawienia kamery EBSD mogą dostosować się do parametrów pracy detektora EDS,

n. system EBSD musi posiadać funkcję automatycznej korekcji dryftu wiązki elektronowej i stolika goniometrycznego w czasie długotrwałej równoczesnej akwizycji map rozkładu pierwiastków (EDS) i map orientacji krystalograficznych,

o. system EBSD musi być wyposażony w osprzęt i oprogramowanie niezbędne do akwizycji i analizy map orientacji krystalograficznych oraz do prowadzenia pełnej identyfikacji faz,

p. dostarczony w komplecie komputer powinien być dedykowany do obsługi oprogramowania sterującego i powinien umożliwiać wykorzystanie możliwości detektora EBSD
	

	42
	Oprogramowanie sterujące kamerą EBSD
	Oprogramowanie sterujące kamerą EBSD musi:

l. pozwalać na pracę w środowisku 64-bitowego systemu operacyjnego MS Windows 10 lub równoważnego;

m. posiadać możliwość charakteryzacji mikrostruktury materiału bez wykonania pełnej mapy EBSD, kompatybilnej dla różnego rodzaju próbek m im. polimerów, ceramiki czy stopów metali;

n. umożliwiać akwizycję i analizę obrazów dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych;

o. umożliwiać wybór dowolnego obszaru skanowania dla uzyskania map orientacji krystalograficznych poprzez zaznaczenie obszaru w polu obrazu mikroskopowego, kształt obszaru skanowania może być dowolnej wielkości (w obszarze liniowym);

p. umożliwiać wskaźnikowanie wszystkich układów krystalicznych i grup przestrzennych;

q. zawierać wszechstronny pakiet funkcji analizy zebranych map orientacji krystalograficznych;

r. powinno zawierać zintegrowany edytor plików z referencyjnymi danymi dyfrakcji elektronowej dla różnych materiałów, z możliwością wprowadzania stałych sieci symetrii i położeń atomów oraz budowania własnej bazy danych dyfrakcji elektronowej;

s. zawierać bibliotekę indexów EBSD z co najmniej 480 wpisami;

t. system indeksowania faz oparty o dopasowanie minimum 3 przylegających ze sobą płaszczyzn;

u. informować o dopasowaniu rozwiązania indeksacji w każdym punkcie;

v. możliwość szybkiego podglądu dyfrakcji i jej zindeksowania z każdego miejsca na zapisanym obrazie elektronowym, poprzez wskazanie punktu przy pomocy myszy komputerowej bez konieczności wykonania pełnej mapy EBSD na całym obszarze;


	

	43
	Zasilanie
	Urządzenie musi być przystosowane do zasilania sieciowego 230 V/50Hz
	

	44
	Zasilanie awaryjne mikroskopu
	Do urządzenia musi zostać dołączony automatyczny układ zabezpieczeń mikroskopu na wypadek awarii zasilania, spadku napięcia, w postaci UPS’a z filtrami, zapewniający podtrzymanie zasilania Urządzenia do minimum 15 minut;

Układ zasilania awaryjnego musi posiadać zestaw wszystkich potrzebnych przewodów do połączeń, o długości wystarczającej do podłączenia mikroskopu na odległości co najmniej 5 m.
	

	45
	Dedykowane biurko do pracy przy mikroskopie wraz z fotelem dla operatora
	Wymagane
	

	46
	Gwarancja 
	Minimum 24 miesiące od daty podpisania bezwarunkowego protokołu odbioru;

Wykonawca pokrywa  koszty części zamiennych  oraz usługi: robocizny, dojazdów oraz noclegów autoryzowanego serwisu producenta
	

	47
	Dostawa, Instalacja, uruchomienie, testowanie systemu wraz z podukładami i zawarte w cenie szkolenie użytkowników wskazanych przez Zamawiającego
	Wymagane
	

	48
	Urządzenie musi być dostarczone w stanie gotowym do pracy bez konieczności kupna dodatkowych przystawek, okablowania, licencji, urządzeń niezbędnych do jego uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania.
	Wymagane;

Mikroskop musi zawierać zestaw wszystkich potrzebnych przewodów (kabli elektrycznych, światłowodowych i innych) do połączeń, o długościach wystarczających do podłączenia mikroskopu, kompresora, systemu chłodzenia i UPS.
	

	49
	Urządzenie musi być wyposażone w system do zdalnej diagnostyki i analizy stanu urządzenia za pośrednictwem sieci Internet, co wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do zdiagnozowania i usunięcia usterek oraz pozwoli również na skrócenie czasu przestoju urządzenia do niezbędnego minimum
	Wymagane
	

	50
	Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia testu akceptacyjnego.

	W ramach testu akceptacyjnego w miejscu instalacji Urządzenia zostaną przeprowadzone następujące testy:

1.        Sprawdzenie poprawności działania wszystkich układów i elementów Urządzenia poprzez przeprowadzenie testów sprawdzających według norm producenta.

2.
Test zdolności rozdzielczej obrazowania wiązką elektronową.

a.
Zdolność rozdzielcza obrazowania w modzie elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym 15 kV na standardowej próbce ziaren złota na węglu nie może być gorsza niż 0,7 nm. 

Test : Pomiar rozdzielczości na próbce złota na podłożu węglowym (preparat dla potrzeb testu zapewnia Wykonawca)

b.
Zdolność rozdzielcza obrazowania w modzie elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym 1 kV na standardowej próbce ziaren złota na węglu nie może być gorsza niż 1,5 nm.  

Test : Pomiar rozdzielczości na próbce złota na podłożu węglowym (preparat dla potrzeb testu zapewnia Wykonawca)

c.     Zdolność rozdzielcza obrazowania w modzie elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym 500 V na standardowej próbce ziaren złota na węglu nie może być gorsza niż 1,5 nm.  

Test : Pomiar rozdzielczości na próbce złota na podłożu węglowym (preparat dla potrzeb testu zapewnia Wykonawca)

d.     Zdolność rozdzielcza obrazowania w modzie STEM (podpróbkowym) przy napięciu przyspieszającym 30 kV nie może być gorsza niż 0,7 nm.  

Test : Pomiar rozdzielczości na preparacie transmisyjnym (preparat dla potrzeb testu zapewnia Wykonawca)

4. Test rozdzielczości obrazowania wiązką jonów: 

d. Zdolność rozdzielcza układu FIB definiowana jako zdolność rozdzielcza obrazowania w modzie elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym wiązkę jonów 30 kV na standardowej próbce grafitu nie może być gorsza niż 4 nm. Test : Pomiar rozdzielczości na próbce grafitu (preparat dla potrzeb testu zapewnia Wykonawca)

e. Zdolność rozdzielcza układu FIB definiowana jako zdolność rozdzielcza obrazowania w modzie elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym wiązkę jonów 2 kV na standardowej próbce grafitu nie może być gorsza niż 60 nm. Test : Pomiar rozdzielczości na próbce grafitu (preparat dla potrzeb testu zapewnia Wykonawca)

f. Zdolność rozdzielcza układu FIB definiowana jako zdolność rozdzielcza obrazowania w modzie elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym wiązkę jonów 1 kV na standardowej próbce grafitu nie może być gorsza niż 130 nm. Test : Pomiar rozdzielczości na próbce grafitu (preparat dla potrzeb testu zapewnia Wykonawca)

4.
Test rozdzielczości energetycznej systemu EDS:

 Pomiar rozdzielczości na próbce Mn. Detektor SDD spektrometru EDS musi posiadać zdolność rozdzielczą 127 eV lub lepszą (specyfikowaną dla linii Mn Kα) (preparat dla potrzeb testu zapewnia Wykonawca)

Wykonawca musi zapewnić warunki i materiały niezbędne do przeprowadzenia testów.
	

	51
	Instrukcja obsługi
	Instrukcja obsługi mikroskopu i wszystkich podzespołów (EDS, EBSD, FIB, GIS, mikromanipulator, układ chłodzący, kompresor, oraz pozostałe) w języku polskim lub angielskim. Obsługa wszystkich elementów Urządzenia/systemów musi być możliwa przy wykorzystaniu języka polskiego lub angielskiego (dotyczy to w szczególności opisu elementów sterujących na konsolach, klawiaturze, urządzeniach itd.).
	

	52
	Pełne szkolenie z zakresu obsługi wszystkich elementów systemu oraz szkolenie aplikacyjne w zakresie wysokorozdzielczego obrazowania na mikroskopie dla co najmniej 4 osób, w laboratorium Zamawiającego po instalacji
	Wymagane 6 dni szkolenia aplikacyjnego w dwóch turach po 3 dni w odstępie ok. 3 miesięcy
	

	53
	Dodatkowe szkolenie z zakresu obsługi układu EDS i EBSD oraz szkolenie aplikacyjne, dla co najmniej 4 osób, w laboratorium Zamawiającego
	Wymagane 
	

	54
	Zewnętrzne urządzenie do napylania cienkich warstw przewodzących (węgiel i ciężki metal)
	Urządzenie musi mieć możliwość napylania metodą jonowego rozpylania metalami szlachetnymi oraz ewaporacyjnego napylania węgla wykorzystując wymienne głowice

- Urządzenie musi być wyposażone w automatyczną przesłonę, która będzie chroniła preparat przed niekorzystnymi efektami przed rozpoczęciem procesu napylania dla wszystkich rodzajów głowic;

- Urządzenie musi być wyposażone w próżniową pompę wytwarzającą maksymalną próżnię o ciśnieniu nie większym niż 2x10-5 mbar.

- Urządzenie musi posiadać zintegrowany panel dotykowy do obsługi i zmiany parametrów procesu. Wyświetlacz jednocześnie powinien wskazywać przynajmniej podstawowe dane parametry procesu napylania  takie jak: wielkość próżni, status pracy itp.;

- Urządzenie musi być wyposażone w układ do pomiaru grubości napylonej warstwy w czasie rzeczywistym przy pomocy wagi kwarcowej z dokładnością poniżej 1 nm. Waga kwarcowa musi być umieszczona na stoliku z próbkami. Urządzenie musi posiadać możliwość umieszczenia wagi kwarcowej w minimum 2 miejscach w zależności od wielkości próbek – na środku stolika oraz na jego krawędzi.  

- Oprogramowanie musi umożliwiać w pełni automatyczny proces napylania tj. odpompowania, przepłukania argonem i stabilizacji plazmy (dla napylania metalami), otwarcia przysłony głowicy, napylenia zadanej grubości lub napylania określonego zadanym czasem trwania procesu, „zapowietrzenia” (lub pozostawienie pod próżnią);

- Urządzenie musi umożliwiać zdefiniowanie zakończenia trwania procesu na podstawie określenia przez użytkownika maksymalnego czasu napylania lub żądanej grubości napylanej warstwy;


	


2. Tabela wymagań dodatkowych punktowanych mikroskopu SEM/FIB

	Lp.
	
Elementy wyposażenia i parametry techniczne (zarówno samego Urządzenia, jak i elementów wyposażenia dodatkowego)
	Wymagania dodatkowe, jakie powinno spełniać zamawiane Urządzenie
	Dodatkowe punkty
	Tak/nie

-podać oferowane parametry-

	Wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy z wyposażeniem



	1
	Pierścieniowy detektor elektronów wstecznie rozproszonych – 10 pkt
	Detektor elektronów wstecznie rozproszonych z podziałem na 4 lub więcej niezależnych pierścieni z podziałem zewnętrznych pierścieni na co najmniej 3 niezależne sektory. Pierścienie detektora mają być rozmieszczone koncentrycznie względem siebie i muszą wykazywać selektywne obrazowanie kontrastu materiałowego i topografii powierzchni badanej próbki w zależności od napięcia i kąta rozproszenia elektronów BSE względem wiązki pierwotnej. Sektory detektora muszą umożliwiać obrazowanie powierzchni z różnych stron, a tym samym pozwalają na uzyskanie informacji 3D. Przez słowo „niezależne” rozumie się możliwość odczytu sygnału z każdego pierścienia jednocześnie i z każdego sektora jednocześnie. Detektor musi mieć czułość wystarczającą na obrazowanie BSE przy energiach od 700 eV bez użycia polaryzacji stolika.

Detektor powinien być zamontowany na ruchomym, automatycznie wsuwanym ramieniu pozwalającym na umieszczenie detektora pod nabiegunnikiem (wymagane sterowane z poziomu głównego oprogramowania sterującego pracą mikroskopu)
	3 pkt
	

	2
	Niskie rozmycie energetyczne wiązki elektronowej
	Konstrukcja mikroskopu gwarantuje rozmycie energetyczne wiązki elektronowej poniżej 0,25 eV dla energii wiązki elektronowej w zakresie minimum od 200 V – 3 kV
	3 pkt
	

	3
	Wielosektorowy detektor elektronów przechodzących (STEM) wraz ze stolikiem
	Automatycznie wsuwany detektor elektronów przechodzących przez próbkę (STEM) z podziałem na minimum 11 sektorów na które składają się:

- sektor pola jasnego BF,

- minimum 4 sektory pola ciemnego DF w postaci koncentrycznych pierścieni,

- minimum 6 sektorów szerokokątowego pola ciemnego HAADF uruchamianych niezależnie lub mogących utworzyć pełen pierścień.
Detektor zintegrowany z oprogramowaniem głównym mikroskopu pozwalającym na ustawienie i zapisanie parametrów skanowania do sekwencyjnego obrazowania na wszystkich sektorach detektora.  


	5 pkt
	

	4
	Potrójny układ detekcji wewnątrzkolumnowej
	Układ detekcji wewnątrzkolumnowej zawierający trzy detektory i umożliwiający ich jednoczesny odczyt (przy pojedynczym skanie wiązką) w tym obrazowanie BSE na każdym detektorze jednocześnie
	3 pkt
	

	5
	Osłona kolumny elektronowej do pracy z wysokimi prądami FIB


	Specjalna osłona (shutter) wprowadzana przy pracy z kolumną jonową, sterowana z oprogramowania głównego mikroskopu, zabezpieczająca detektory in-lens podczas długotrwałej pracy z kolumną FIB oraz GIS przy wysokich prądach.
	3 pkt
	

	6
	Mikromanipulator do precyzyjnego wyciągania i przenoszenia lamelek
	Mikromanipulator sterowany z głównego oprogramowania mikroskopu w pełni współpracujący z automatycznym programem do wycinania lamelek oraz posiadający cechy:

- osie ruchu manipulatora są powiązane z obrazami SEM i FIB

- automatyczna rotacja igły manipulatora w zakresie 360° ° przy czym przesunięcie igły nie może być większe niż 5 µm wzdłuż żadnej osi przy obrocie o 180°.

- zautomatyzowane oprogramowanie do wyciągania lamelek TEM musi automatycznie ustawić końcówkę mikromanipulatora w odległości nie większej niż 3 µm od krawędzi lamelki lub siatki TEM 

- powtarzalność ruchów igły mikromanipulatora we wszystkich osiach nie może być gorsza niż 160 nm, 

- minimalny krok przesuwu igły ≤60nm,

- dryf igły <60 nm/min
	6 pkt
	

	7
	Zdolność rozdzielcza obrazowania wiązką jonów FIB 
	Zdolność rozdzielcza obrazowania wiązką jonów FIB przy napięciu przyspieszającym 2 kV nie gorsza niż 40 nm wykazana w miejscu instalacji na próbce grafitu.
	7 pkt
	

	8
	Zdolność rozdzielcza obrazowania wiązką jonów FIB 
	Zdolność rozdzielcza obrazowania wiązką jonów FIB przy napięciu przyspieszającym 1 kV nie gorsza niż 90 nm wykazana w miejscu instalacji na próbce grafitu.
	7 pkt
	

	9
	Sterowanie zintegrowanym z komorą SEM urządzeniem do czyszczenia plazmowego (plasma cleaner)
	Sterowanie urządzeniem musi być realizowane z poziomu głównego oprogramowania sterującego pracą mikroskopu. Uruchomienie procesu czyszczenia plazmowego musi odbywać się w sposób automatyczny bez ingerencji operatora. Oprogramowanie mikroskopu musi automatycznie wysuwać z komory detektory BSE, STEM, automatycznie wyłączać wiązkę elektronową oraz w bezpieczny sposób zwalniać pompę turbo do osiągnięcia odpowiedniego ciśnienia w komorze.
	3 pkt
	

	10
	Zdolność rozdzielcza obrazowania SEM w modzie SE przy 1 kV 
	Zdolność rozdzielcza obrazowania SEM w modzie SE przy napięciu przyspieszającym 1 kV ≤ 0,7 nm wykazana w miejscu instalacji na próbce ziaren złota na węglu  
	5 pkt
	

	11
	Zdolność rozdzielcza obrazowania SEM w modzie SE przy 500 V 
	Zdolność rozdzielcza obrazowania SEM w modzie SE przy napięciu przyspieszającym 500 V ≤1 nm wykazana w miejscu instalacji na próbce ziaren złota na węglu  
	5 pkt
	

	12
	Generator skanu
	Wyposażenie mikroskopu w generator skanu umożliwiający skanowanie przeplatane, co wybraną zdefiniowaną przez użytkownika linię celem minimalizacji ładowania się próbki
	3 pkt
	

	13
	Układ automatycznego justowania kolumny elektronowej i kolumny jonowej mikroskopu
	Układ automatycznego justowania kolumny elektronowej i kolumny jonowej mikroskopu
	2 pkt
	


3. Dyfraktometr rentgenowski: wymagania minimalne
	Lp.
	
Elementy wyposażenia i parametry techniczne (zarówno samego Urządzenia, jak i elementów wyposażenia dodatkowego)
	Wymagania minimalne, jakie powinno spełniać zamawiane Urządzenie
	Tak/nie

-podać oferowane parametry-

	1
	Generator
	Zasilanie 220-230v/50Hz, moc > 2 kW, napięcie przyśpieszające min. zakres 20 – 50 kV, regulowane 1 kV, natężenie prądu min. zakres 5 – 50 mA, regulowane co 1 mA. 
	

	2
	Lampa rentgenowska
	· Moc lampy min. 2 kW

· Ceramiczna lampa rentgenowska z anodą Cu o długim wąskim ognisku typu: long fine focus, 
	

	3
	Osłona
	Obudowa przeciwradiacyjna spełniająca normy europejskie w zakresie promieniowania jonizującego poniżej 1µSv/h w odległości pomiędzy 10cm a 15cm od obudowy.
	

	4
	Goniometr
	· Pionowy w konfiguracji Theta/Theta,

· Zakres kątów 2θ co najmniej: -10 -- +160

· Powtarzalność ustawienia nie gorsza niż +/- 0,0001°,

· Krok pomiarowy regulowany od wartości minimalnej nie mniejszej niż 0,0001°,

· Wyposażony w silniki krokowe z optycznymi enkoderami,

Automatyczny czujnik kolizji oraz kontroli konfliktu elementów błędnie zainstalowanych.
	

	5
	Optyka wiązki
	· Automatyczne rozpoznawanie elementów układu w czasie rzeczywistym,

· Zespół automatycznej szczeliny dywergencji wraz ze szczeliną Sollera dla wiązki pierwotnej umożliwiające współpracę z detektorem energodyspersyjnym,

· Zwierciadło paraboliczne dające wiązkę równoległą wiązki pierwotnej dla promieniowania Cu,

· Zespół szczelin dla wiązki wtórnej do geometrii wiązki poślizgowej (Grazing incidence GID) umożliwiające współpracę z detektorem energodyspersyjnym.
	

	6
	Detektor
	· Bezobsługowy, szybki licznik energodyspersyjny wykonany w technologii paskowej, pracujący w trybie 0D, 1D wraz z elektroniką kontrolno-pomiarową bez martwych pasków i obszarów wyłączonych,

· W pełni automatyczne rozpoznawanie i konfiguracja detektora w czasie rzeczywistym
	

	7
	Stolik
	Standardowy, obrotowy stolik na próbki pracujący w geometrii odbiciowej umożliwiający montaż przystawki do pomiarów wysokotemperaturowych i instalację próbek o wymiarach co najmniej 30x30 mm i 20 mm wysokości
	

	8
	Przystawka do pomiarów wysokotemperaturowych
	· Automatyczne rozpoznawanie komory temperaturowej w czasie rzeczywistym,

· Zakres temperaturowy: od RT (temperatura pokojowa) do 1200 °C.

· Możliwość wykonywania pomiarów w geometrii GID

· Komora umożliwiająca pomiary w atmosferze gazu obojętnego.
	

	9
	Oprogramowanie


	· Program sterujący pracą dyfraktometru i zbierający dane spełniające następujące funkcje: 

· Alarm powiadomienia o możliwości kolizji przy błędnych komendach,

· Kontrola i wykrywanie błędów konfiguracji, propozycja geometrii pomiaru

· Automatyczne uruchamianie lampy rentgenowskiej w celu zapewnienia maksymalnej żywotności oraz automatyczna procedura wygrzewania nowej lampy rentgenowskiej,

· Graficzna reprezentacja przyrządu do wyświetlania w czasie rzeczywistym aktualnej konfiguracji przyrządu w oparciu o rozpoznawanie części, walidację w czasie rzeczywistym i wykrywanie konfliktów oraz planowanie pomiarów.

· Program do analizy fazowej – 10 licencji stanowiskowych.
	

	10
	Układ chłodzenia
	Zamknięty układ chłodzenia woda-powietrze o mocy chłodzącej dostosowany do oferowanego urządzenia
	

	11
	Układ zasilania gazem
	Kompletny układ zapewniający przepływ gazu obojętnego w komorze do pomiarów wysokotemperaturowych
	

	12
	Dodatkowe wyposażenie


	· Baza danych zawierająca min. 300 000 wpisów do szybkiej i dokładnej identyfikacji faz, obejmująca następujące klasy materiałów: metale i stopy, minerały ceramiczne, pigmenty i farby, substancje farmaceutyczne i polimery – licencja na 1 stanowisko komputerowe na okres min. 5 lat,

· Komputer kontrolno-pomiarowy do sterowania pracą dyfraktometru wraz z zainstalowanym oprogramowaniem aplikacyjnym,

· Oprogramowanie do edytowania wyników i tworzenia raportów – licencja na 1 stanowisko komputerowe, 

· Nośniki licencji USB – 3 szt.,

· Drukarka laserowa – 1 szt.,

· Certyfikowany materiał wzorcowy wymagany do pełnej kalibracji i justowania dyfraktometru.
	

	13
	Serwis


	Czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego najpóźniej do 5 dni roboczych tj. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin oraz ustalenia rodzaju usterki w ciągu 5 dni roboczych po zgłoszeniu wady (awarii) faksem lub e-mailem.
	

	14
	Dodatkowe wyposażenie
	Dedykowane narzędzia i elementy niezbędne dla montażu/demontażu podstawowych części wyposażenia, próbek oraz podstawowego serwisu 
	

	15
	Gwarancja 
	Minimum 24 miesiące od daty podpisania bezwarunkowego protokołu odbioru;

Wykonawca pokrywa  koszty części zamiennych  oraz usługi: robocizny, dojazdów oraz noclegów autoryzowanego serwisu producenta
	

	16
	Dostawa, Instalacja, uruchomienie, testowanie systemu wraz z podukładami i zawarte w cenie szkolenie użytkowników (min. 4 osób) wskazanych przez Zamawiającego
	Wymagane

· Instruktaż z zakresu użytkowania dyfraktometru i oprogramowania podczas montażu urządzenia,

· Szkolenie aplikacyjne (1 faza) w laboratorium Zamawiającego - 3 dni

· Druga faza szkolenia aplikacyjnego w laboratorium Zamawiającego po okresie min. 3 miesięcy od 1 fazy szkolenia
	

	17
	Dedykowane biurko do pracy przy mikroskopie wraz z fotelem dla operatora
	Wymagane
	

	18
	Urządzenie musi być dostarczone w jako fabrycznie nowe, w stanie gotowym do pracy bez konieczności kupna dodatkowych przystawek, okablowania, licencji, certyfikatów i innych urządzeń niezbędnych do jego uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania.
	Wymagane

Dyfraktometr musi zawierać zestaw wszystkich potrzebnych przewodów (kabli elektrycznych, światłowodowych, gazowych, złączek, reduktorów itp) o długościach wystarczających do podłączenia urządzenia w przewidzianym pomieszczeniu. 
	

	19
	Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia testu akceptacyjnego.

	W ramach testu akceptacyjnego w miejscu instalacji Urządzenia zostaną przeprowadzone następujące testy:

· Rejestracja widma na standardowej próbce polikrystalicznej

· Rejestracja widma na standardowej próbce proszkowej

· Rejestracja widma na standardowej próbce monokrystalicznej

· Rejestracja widma na próbce polikrystalicznej przy maksymalnej temperaturze pracy

· Rejestracja widma na próbce warstwowej w trybie GXRD (GID)

· Rejestracja widma na próbce warstwowej w trybie GXRD (GID) w wysokiej temperaturze

Wykonawca musi zapewnić warunki i materiały niezbędne do przeprowadzenia testów.
	

	20
	Instrukcja obsługi
	Instrukcja obsługi  dyfraktometru i jego wszystkich podzespołów (przystawka GXRD, przystawka wysokotemperaturowa, program sterujący, bazy danych itp) w języku polskim lub angielskim. Obsługa wszystkich elementów Urządzenia/systemów musi być możliwa przy wykorzystaniu języka polskiego lub angielskiego (dotyczy to w szczególności opisu elementów sterujących na konsolach, klawiaturze, urządzeniach itd.).
	

	21
	Certyfikaty i zezwolenia
	Wszystkie niezbędne certyfikaty i zezwolenia konieczne do legalnego użytkowania urządzenia (elektryczne, osłony radiacyjne itp.). 
	


4. Tabela wymagań dodatkowych punktowanych dla dyfraktometru rentgenowskiego

	Lp.
	
Elementy wyposażenia i parametry techniczne (zarówno samego urządzenia, jak i elementów wyposażenia dodatkowego)
	Dodatkowe punkty
	Tak/nie

-podać oferowane parametry-

	Dyfraktometr rentgenowski z opcją GXRD i przystawką do pomiarów wysokotemperaturowych



	1
	Jednomodułowy układ optyczny po stronie pierwotnej obejmujący zespół szczelin automatycznych i kryształ umożliwiający uzyskanie wiązki równoległej (np. zwierciadło Gobela), oraz jednomodułowy układ optyczny po stronie wtórnej obejmujący zespół szczelin automatycznych i szczelin Sollera, pozwalające na przełączanie między geometrią Bragga-Brentano, a geometrią wiązki równoległej z pozycji oprogramowania bez konieczności justowania urządzenia oraz fizycznej/manualnej wymiany komponentów.
	5 pkt


	

	2
	Rozdzielczość energetyczna detektora lepsza niż 400eV dla promieniowania Cu w temperaturze pokojowej 
	4 pkt
	

	3
	Przystawka do pomiarów wysokotemperaturowych umożliwiająca pomiary do 1600C z możliwością pomiarów w geometrii GID
	5 pkt 
	

	4
	Dodatkowe zawarte w cenie szkolenia aktualizujące raz na dwa lata
	1 pkt
	


Załącznik nr 3 do SIWZ

	…......................….........................
(miejscowość i data)

	

	
	Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Nr referencyjny: IZP.270.102.2020


	Wykonawca:

………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)


	


OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) i dyfraktometru rentgenowskiego w formie leasingu ”, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że nie należymy / należymy(*) do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), razem z innym Wykonawcą / Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.  

	
	……………………………………………………………….

(data i podpis składającej oświadczenie)


(*) - niepotrzebne skreślić
Informacja dodatkowa:

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY 

Nr  IZP.271.102.2020.ZP

W dniu                             2020 r.   w Otwocku zawarto umowę pomiędzy: 

Narodowym Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku (05-400), ul. Andrzeja Sołtana 7, instytutem badawczym wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000171393, NIP: 532-010-01-25, REGON: 001024043, BDO…………., zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Korzystającym”

reprezentowanym przez: [...]

a oferentem wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego – […], zwanym dalej „ Dostawcą”, reprezentowanym przez [...] 

Zamawiający i  Dostawcą zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”,

zwana dalej „Umową” o następującej treści:

Strony zgodnie oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Ustawą”), w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa :
a. wysokorozdzielczego skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) najnowszej generacji w układzie ze zogniskowaną wiązką jonów (FIB) wraz z systemem mikroanalizy EDS, 
b. dyfraktometru rentgenowskiego umożliwiającego pomiary w układzie Bragg-Brentano i GXRD (GID) wyposażonego w przystawkę umożliwiającą pomiary in-situ w wysokich temperaturach, min. 1200C i w system do dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD),
w formie leasingu wraz z przekazaniem przez Dostawcę  na czas oznaczony prawa ich używania i pobierania pożytków, ze wszelkimi dokumentami koniecznymi dla prawidłowego użytkowania oraz przeniesieniem na Zamawiającego własności  ww. urządzeń po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu („przedmiot Umowy”). 
2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (OPZ).
3. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku, kompletne i po zamontowaniu i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
4. Strony dopuszczają możliwość dostawy etapami wraz z etapowaniem rat leasingowych. 
§ 2

Warunki dostawy, montażu, szkolenia personelu 

1. Dostawca  zobowiązuje się do:

1. Nabycia przedmiotu Umowy od Zbywcy i oddania Zamawiającemu do używania lub używania i pobierania pożytków, 

2. Dostarczenia przedmiotu Umowy pod wskazany adres Zamawiającego oraz jego montażu,  uruchomienia i zawartego w cenie przeszkolenia personelu w terminie określonym w niniejszej Umowie,

3. Dostarczenia wraz ze sprzętem certyfikatów, deklaracji, kart gwarancyjnych, instrukcji użytkowania w języku polskim, niezbędnej dokumentacji technicznej sprzętu.,
2. Wszystkie koszty dostawy, w tym koszty transportu i ubezpieczenia, ponosi Dostawca..

3. Za wszystkie szkody powstałe podczas montażu lub instalacji sprzętu odpowiedzialność ponosi Dostawca . 

4. Przeszkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu zostanie przeprowadzone po uprzednim uzgodnieniu terminów z Zamawiającym. Liczbę osób szkolonych określa Zamawiający.
5. Zamawiający zobowiązuje się używać przedmiot Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, na

cele związane z prowadzoną działalnością i wymogami prawidłowej eksploatacji.

6. Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy:
- Ze strony Zamawiającego: …………… tel: ……………...e-mail: ...........

- Ze strony Dostawcy: …………………tel: …………. e-mail:………...

7. Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 8.00-15.30.
§ 3

Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Termin dostawy przedmiotu Umowy : do ………  dni/ tygodni od dnia podpisania Umowy. 

2. Strony dopuszczają dostawy etapami - wg terminów ustalonych przez Zamawiającego. 

§ 4
Odbiory

1. Za termin wykonania Umowy uważany będzie dzień podpisania protokołu odbioru całości zadania przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną bez uwag.

2. Przez całość zadania rozumie się realizację, dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń i oprogramowania, zgodnie z OPZ i ofertą Dostawcy. .
3. Odbiór całościowy potwierdzony zostanie w pisemnym protokole odbioru. Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do odmowy podpisania protokołu odbioru, jeżeli przedmiot umowy będzie miał wady.
§ 5

Warunki finansowe
10. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy wynagrodzenie w formie opłat leasingowych za dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu oraz za wykonanie innych określonych w Umowie i załącznikach do niej obowiązków, tj. w kwocie……………………zł netto, kwocie brutto …………….zł  na podstawie złożonej oferty. 

11. Ceną przedmiotu Umowy , od której naliczane są opłaty leasingowe jest cena nabycia netto przez Dostawcy , która wynosi dla poszczególnych przedmiotów:

a. wysokorozdzielczy skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) najnowszej generacji w układzie ze zogniskowaną wiązką jonów (FIB) wraz z systemem mikroanalizy EDS - …………………………….. zł,
dyfraktometr rentgenowski umożliwiający pomiary w układzie Bragg-Brentano i GXRD (GID) wyposażony w przystawkę umożliwiającą pomiary in-situ w wysokich temperaturach, min. 1200C i w system do dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) - ……………………… zł.3. Wynagrodzenie obejmuje:

a. część kapitałową, na którą składają się: 

i. opłata wstępna w wysokości ………………………………….. zł, płatna  nie później niż 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. 

ii. 24 miesięczne raty leasingowe, pomniejszone o opłatę wstępną i opłatę końcową, płatne w okresach miesięcznych przy czym: pierwsza rata płatna w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru, a następne raty na koniec każdego kolejnego miesiąca zgodnie z harmonogramie będącym załącznikiem nr 2 do umowy,

iii. Opłata końcowa w wysokości 1 % ceny przedmiotu Leasingu, płatna nie wcześniej niż w terminie zapłaty ostatniej raty leasingowej.

b. część odsetkową, w której skład wchodzi: oprocentowanie według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR 3M (dla depozytów 3-miesięcznych w PLN) powiększonej o stałą marżę w wysokości ………… (słownie: ………………….) punktów procentowych rocznie.

· Oprocentowanie wynosi na dzień zawarcia umowy ………… % (słownie: ……………….) w stosunku rocznym. Odsetki naliczane są przez Finansującego na bazie 365(366)/365, czyli według rzeczywistej liczby dni okresu, za który naliczane są odsetki oraz przy założeniu, że rok bazowy ma 365 dni.

· Część odsetkowa jest naliczana i płatna w okresach miesięcznych razem z kapitałową ratą leasingową.

· Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR 3M z dnia ………. r., tj. wartość …….. % p.a. (słownie: ……………….. ). Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR_3M ustaloną na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. 
· Zmiana oprocentowania leasingu spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do Umowy.

12. Wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia zostało skalkulowane przy założeniu stopy bazowej: WIBOR 3M z dnia …. r. równej …………..%.
13. Zamawiający zapłaci Finansującemu należne mu wynagrodzenie zgodnie z harmonogramem opłat leasingowych, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Harmonogram opłat leasingowych zawierać będzie m.in. wszystkie kwoty wyrażone w PLN i terminy płatności.
14. Płatności będą regulowane przelewem na konto Finansującego w banku ………. konto nr ………………………………………………………….. 
15. Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego Finansującemu na podstawie Umowy, w ramach mechanizmu podzielonej płatności (zwanego dalej „Mechanizmem Split Payment”) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej „Ustawą VAT”).
17. Dostawca  oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy, na który ma zostać dokonana zapłata wynagrodzenia należnego mu na podstawie Umowy:
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach Mechanizmu Split Payment;

b) jest rachunkiem znajdującym się w wykazie podmiotów (zwanego dalej „Wykazem”) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b Ustawy VAT.

18. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Dostawca nie będzie spełniać warunków określonych w ust. 2, opóźnienie Zamawiającego w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości zapłaty przez Zamawiającego z zastosowaniem Mechanizmu Split Payment lub na rachunek znajdujący się w Wykazie, nie może stanowić dla Finansującego podstawy jakichkolwiek roszczeń, w tym w szczególności nie uprawnia Finansującego do żądania od Zamawiającego odsetek lub odszkodowań z tytułu nieterminowej zapłaty.

19. Dostawca , zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl PEF nr: NIP 5320100125. Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktur korygujących.
§ 6

Ubezpieczenie

1. Przedmiot  Umowy podlega ubezpieczeniu. 

2. Zamawiający zobowiązany jest ponosić koszty ubezpieczenia przedmiotu Leasingu niezależnie od rat wynagrodzenia.

1. W dniu odbioru przedmiotu Umowy Zamawiający ubezpiecza na swój koszt przedmiot od kradzieży, ognia i innych żywiołów, a następnie w czasie trwania Umowy przedłuża ubezpieczenie na kolejne okresy. 

2. Oryginały polisy ubezpieczenia przekazuje Dostawcy. . 

§ 7

Amortyzacja

Odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych dokonuje Dostawca  .
§ 8
        Gwarancja

1. Dostawca  oświadcza, że dostarczony przedmiot Umowy jest wolny od wszelkich wad fizycznych. 

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Dostawca  oświadcza, że przedmiot Umowy jest wolny od wszelkich wad prawnych, w tym również ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz nie stanowi przedmiotu żadnego zabezpieczenia, ani toczącego się postępowania.

4. Jeżeli podczas odbioru okaże się, że wadliwe są części składowe lub cały dostarczony przedmiot Umowy, to odpowiednio, wadliwe części składowe przedmiotu Umowy lub cały przedmiot Umowy podlega wymianie na wolny od wad w terminie 14 dni.

5. Dostawca  udziela gwarancji na dostarczony przedmiot Umowy  zgodnej z gwarancją producenta na okres: .......................... miesięcy (min. 24 miesiące) licząc od daty przekazania przedmiotu Umowy i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu Umowy, jego kompletność oraz zgodność z Umową.
6. Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Dostawca . Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wady fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad.
7. Jeżeli Dostawca  w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wadach nie powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona. 

8. W przypadku nieuznania reklamacji przez Dostawcę , Zamawiający ma prawo zlecenia wykonania ekspertyzy, w celu ustalenia zasadności zarzutów reklamacji. Koszty ekspertyzy ponosi strona, dla której jest ona niekorzystna. Wyniki ekspertyzy wiążą Dostawcę , skutkiem czego jest on zobowiązany do załatwienia reklamacji w sposób określony w zawiadomieniu o brakach lub wadach w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu ekspertyzy.

9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów.

10. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązany jest do przeglądów technicznych przedmiotu Umowy zgodnie z zaleceniami producenta.

11. Dostawca  obowiązany jest usunąć ujawnione w okresie gwarancji wady przez dokonanie naprawy urządzenia albo wymianę wadliwej części albo wymianę urządzenia na nowe.

§ 9

Nabycie przedmiotu Umowy
Zamawiający nabywa własność przedmiotu  Umowy w dniu zapłaty opłaty końcowej pod warunkiem zapłaty wszystkich rat leasingowych jednak nie wcześniej niż w terminie płatności opłaty końcowej wskazanym w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.  

§ 10
Kary umowne, odstąpienie od Umowy
1. Dostawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu Umowy, określonej w § 5 ust. 1 Umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada dostawca .

2. Dostawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia.  

3. Dostawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wady w okresie gwarancji jakości.

4. Wysokość kar umownych oblicza się od wartości wynagrodzenia netto.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń do pełnej wysokości powstałej szkody.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12
Zmiana Umowy

1.Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Finansującego w następujących przypadkach i na następujących warunkach:
a) zmiana wysokości wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) zmiana w obowiązujących przepisach prawa, powodująca konieczność dokonania zmian w Umowie,
c) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:

- przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres przestojów i opóźnień;

-   innych przerw w realizacji dostawy, powstałych z przyczyn niezależnych od Finansującego; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres zaistniałych przerw;

d) w przypadku zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego postępowania Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, pandemię, epidemię,  zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
e) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej Umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej Umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu i nie wpłynie to na cel przetargu oraz wymogi kontraktowania.
g) zmiana wysokości rat leasingowych,
h) zmiana wysokości oprocentowania,
i) zmiana okresu trwania Umowy,
j) postanowień umowy o charakterze nieistotnym,
k) w sytuacji wystąpienia istotnej zmiany sytuacji finansowej Zamawiającego bądź jego struktury.
Powyższe zmiany nie mogą powodować wzrostu łącznego wynagrodzenia brutto, ustalonego w oparciu o pierwotne zapisy Umowy, za wyjątkiem zmian wynikających ze wzrostu stopy WIBOR w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty z uwzględnieniem aktualizacji harmonogramu płatności.

2.Powyższe postanowienia ust. 1 ppkt. c  stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowiąc jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
3.Zmiana oprocentowania leasingu spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Dostawcą aneksu do Umowy.
§ 13

Postanowienia końcowe

1. W wykonaniu przepisu art. 4c ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy. 

2. Strony oświadczają, iż dane osobowe wskazane w Umowie, w szczególności w jej komparycji i w § 2, przetwarzane będą z należytą starannością na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a przetwarzanie wskazanych wyżej danych osobowych, jest niezbędne do wykonania Umowy.

3. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy oraz Kodeks cywilny.
4. Spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia - spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Strony.
6. Załącznikami do Umowy są:  

a. Szczegółowy opis przedmiotu umowy,

b. Harmonogram płatności, 

c. Oferta Finansującego.
                  DOSTAWCA 
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	Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Nr referencyjny: IZP.270.102.2020

	Wykonawca:

………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)


	


OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT. 22

ORAZ ART. 24 UST. 1 PKT. 15 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) i dyfraktometru rentgenowskiego w formie leasingu ”, oświadczam, że:

1) nie orzeczono / orzeczono* wobec mnie tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, tym samym podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 22 ustawy Pzp;
2) nie wydano / wydano* wobec mnie prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - przedstawiam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, tym samym podlegam / nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 15 ustawy Pzp.
	
	……………………………………………………………….

(data i podpis składającej oświadczenie)


(*) - niepotrzebne skreślić
POUCZENIE:

Art. 297 § 1 KODEKS KARNY: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Załącznik Nr 7 do SIWZ
…......................….........................
(miejscowość i data)
Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. Andrzeja Sołtana 7

05-400 Otwock

Nr referencyjny: IZP.270.102.2020

Wykonawca:

……………………………………………………………………………….............................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………..........................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
WNIOSEK
W imieniu Wykonawcy …………………………………………………………………. wnoszę o udostępnienie dokumentów ………………………………………………….. (wymienić nazwy dokumentów) niezbędnych do przygotowania oferty w postępowaniu pn. „Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) i dyfraktometru rentgenowskiego w formie leasingu ”.

Równocześnie zobowiązuję się do nieudostępniania do publicznej wiadomości, nieujawniania lub nieprzekazywania jakimkolwiek osobom trzecim, w jakiejkolwiek formie oraz niewykorzystywania udostępnionych materiałów w innych celach niż złożenie Oferty w niniejszym postępowaniu.

� skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;


� prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
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